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SUSS MicroTec AG

Garching
Bilanz zum 31. Dezember 2013
Aktiva Passiva
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
€ € € €

A. Anlagevermégen
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ahnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
2. geleistete Anzahlung

II. Sachanlagen
1. Grundstiicke, grundstiicksdhnliche Rechte und Bauten einschlieBlich
der Bauten auf fremden Grundsttiicken
2. technische Anlagen und Maschinen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung
4, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

w

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

B. Umlaufvermogen
1. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
(davon aus Lieferungen und Leistungen € 301.472,25;
Vorjahr € 691.960,49)

2. sonstige Vermogensgegenstande
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 57.043,96;
Vorjahr € 70.684,21)

I1. Wertpapiere

sonstige Wertpapiere
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.323.693,37
85.300,07

1.520.180,36
0,00

1.408.993,44

13.799.595,79

1.520.180,36

4.731.396,12

143.907,35 0,00
487.257,72 410.408,89
0,00 113.337,15
14.430.760,86 5.255.142,16

53.159.218,18
19.336.566,87

57.179.218,18
12.861.025,70

72.495.785,05

70.040.243,88

88.335.539,35

4.278.180,68

748.259,19

76.815.566,40

20.970.824,53

704.880,21

5.026.439,87

2.012.400,00
37.183.091,96

21.675.704,74

11.125.620,00
17.380.970,21

44.221.931,83

311.772,77

50.182.294,95

265.827,34

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalriicklage

III. Gewinnrticklagen

1. gesetzliche Riicklage

2. andere Gewinnriicklagen

IV. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)

B. Riickstellungen
1. Riickstellungen fiir Pensionen und ahnliche Verpflichtungen
2. Steuerriickstellungen
3. sonstige Riickstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.180.000,00;
Vorjahr € 180.000,00)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 299.307,78;
Vorjahr € 306.063,21)

3. Verbindlichkeiten gegentiber verbundenen Unternehmen
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 28.222.057,30;
Vorjahr € 7.923.241,59)

4. sonstige Verbindlichkeiten
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 81.283,39;
Vorjahr € 128.128,69;
davon aus Steuern € 74.662,46; Vorjahr € 47.828,41;
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 538,15;

Vorjahr € 462,90)

19.115.538,00

82.157.253,73

19.115.538,00

82.157.253,73

35.338,09 35.338,09
2.907.501,06 2.907.501,06
2.942.839,15 2.942.839,15

-15.056.710,02

5.544.322,16

89.158.920,86

0,00
0,00
1.940.694,19

109.759.953,04

34.901,81
587.581,54
2.222.271,60

1.940.694,19

11.460.000,00

299.307,78

29.929.037,73

81.283,39

2.844.754,95

4.140.000,00

306.063,21

10.084.788,80

128.128,69

41.769.628,90

14.658.980,70

132.869.243,95

127.263.688,69

132.869.243,95

127.263.688,69







SUSS MicroTec AG

Garching

Gewinn- und Verlustrechnung
fiir die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

2013 2012
€ €
1. Umsatzerlose 6.433.638,72 8.939.474,43
2. Sonstige betriebliche Ertrage 3.589.725,62 4.857.596,62
10.023.364,34 13.797.071,05
3. Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter -2.576.019,48 -2.975.107,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung
und fiir Unterstiitzung -300.595,46 -288.524,52
(davon fiir Altersversorqung € 21.739;
Vorjahr € 22.672,94)
-2.876.614,94 -3.263.631,94
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegensténde
des Anlagevermdégens und Sachanlagen -971.278,57 -1.542.153,77
5. sonstige betriebliche Aufwendungen -5.499.290,05 -6.845.031,21
6. a) Ertrédge aus Gewinnabfiihrungsvertragen 784.559,95 7.079.687,90
b) Ertrége aus Beteiligungen 653.342,80 0,00
7. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 1.432.796,74 1.600.404,06
(davon aus verbundenen Unternehmen € 988.359,94;
Vorjahr € 673.208,85)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermogens -5.620.462,07 -568.957,61
9. Aufwendungen aus Verlustiibernahme -18.223.852,34 0,00
10. Zinsen und ahnliche Aufwendungen -310.815,45 -787.970,64
(davon an verbundene Unternehmen € 29.243,92;
Vorijahr € 101.420,63)
-27.754.998,99 -1.064.021,27
11. Ergebnis der gewohnlichen Geschiftstatigkeit -20.608.249,59 9.469.417,84
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 272.422,10 -1.693.862,84
13. sonstige Steuern -265.204,69 -180.813,48
14. Jahresfehlbetrag (Vi. Jahresiiberschuss ) -20.601.032,18 7.594.741,52
15. Gewinnvortrag aus Vorjahr (Vj. Verlustvortraq) 5.544.322,16 -2.050.419,36
16. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn) -15.056.710,02 5.544.322,16







SUSS MicroTec AG, Garching
Anhang fir das Geschéftsjahr 2013

A. Alilgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Bestimmungen des
Handelsgesetzbuches. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt. Ergdnzende Bilanzierungsvorschriften aus der Satzung bestehen nicht.

Die SUSS MicroTec AG, nachstehend auch ,Gesellschaft* genannt, weist zum Abschluss-Stichtag die
Grolkenmerkmale einer gro3en Kapitalgesellschaft gemaR § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB auf.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsiatze

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Einzelnen folgende
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatze angewandt:

Die immateriellen Vermdgensgegenstande und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert
um planmafige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear und monatsgenau Uber die
voraussichtliche Nutzungsdauer, wobei diese fiir Software drei bzw. finf Jahre betragt. Die Bemessung der
Abschreibungen der anderen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschaftsausstattung erfolgt unter
Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von drei bis finf Jahren. Der Abschreibungszeitraum richtet sich
nach der betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgliter mit Einzelanschaffungs-
kosten bis EUR 410 netto werden nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden mit den Anschaffungskosten zuzliglich
Anschaffungsnebenkosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren
beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermdgensgegensténde sind grundsatzlich mit dem Nennwert angesetzt.
Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Zum 31. Dezember 2006 wurde unter
den sonstigen Vermogensgegenstanden erstmals das langfristige Korperschaftsteuerguthaben in Folge des
Gesetzes Uber steuerliche BegleitmalBnahmen zur Einfiihrung der Europaischen Gesellschaft und zur
Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften (SESTEG) in Héhe von TEUR 87 aktiviert. Im Geschéaftsjahr
2008 wurden auf Grund der Ergebnisse der Betriebspriifung weitere TEUR 69 aktiviert. Das Guthaben wird
in zehn gleichen Jahresbetragen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag
unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzins-
satz von 3,10 % p.a. zugrunde gelegt.

Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Werten am Bilanzstichtag
bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthalt Ausgaben, die Aufwand fir einen bestimmten Zeitraum
nach dem Stichtag darstellen.

In Anlehnung an internationale Rechnungslegungsvorschriften wird der Wert der gewahrten Aktienoptionen
im Personalaufwand und in der Kapitalricklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB erfasst. Die entsprechende
Dotierung wird zeitanteilig uber den Leistungszeitraum von zwei bzw. finf Jahren gemafR den bestehenden
Aktienoptionsplanen verteilt.

Die Pensionsverpflichtung in Héhe von EUR 34.901,81 wurde Mitte des Jahres 2013 ausbezahit.

Die Ruckstellung fur Altersteilzeit wurde nach versicherungsmathematischen Grundsatzen ermittelt. Der
entsprechende Aktivwert wurde bei der Saldierung geman § 246 Abs. 2 HGB mit dem Zeitwert in Héhe von
EUR 14.774 berucksichtigt. Dieser Wert stellt gleichzeitig die fortgefihrten Anschaffungskosten der
Ruckdeckungsversicherung dar. Der Erflllungsbetrag wurde bei der Saldierung in Héhe in EUR 18.867
bertcksichtigt. Die Aufwendungen aus der Abzinsung betrugen EUR 0, die Ertrage aus der Aufzinsung
betrugen EUR 2.455,46. Die Verpflichtung endet zum 30.06.2014.



SUSS MicroTec AG, Garching
Anhang fir das Geschéftsjahr 2013

Auf  Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansatzen von
Vermogensgegenstanden und Schulden sowie auf steuerliche Verlustvortrage wird ein Uberhang an aktiven
latenten Steuern nicht angesetzt.

Die sonstigen Rickstellungen werden in Hbhe des nach verninftiger kaufmannischer Beurteilung
notwendigen Erfilllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfullungsbetrag angesetzt.

Die Aufwendungen und Ertrage der Gesellschaft sind entsprechend ihrer wirtschaftlichen Verursachung
dem jeweiligen Geschéftsjahr zugeordnet.

Zur Umrechnung von Fremdwahrungspositionen in der Bilanz wurden die am Bilanzstichtag gultigen
mittleren Devisenkurse verwendet. Bei langfristigen Fremdwahrungspositionen wurde das Imparitatsprinzip
beachtet. Sofern die Griinde fiir eine vorgenommene Fremdwahrungsabwertung nicht mehr bestehen,
erfolgt eine Zuschreibung entsprechend dem Wertaufholungsgebot.

C. Erlauterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Die Zusammensetzung und Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagengegenstande einschlie3lich der
Abschreibungen im Geschéftsjahr sind dem in der Anlage zum Anhang enthaltenen Anlagenspiegel zu
entnehmen.



SUSS MicroTec AG, Garching
Anhang fiir das Geschiftsjahr 2013

Der Anteilsbesitz stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

Buchwerte Jahresiberschuss/
- r r
. . Eigenkapital Beteiligungs- ° -ef:EIbZt?:guss
1.1.2013 Zugange Abgange/ 31.12.2013 quote Geschéftsjahr 2013
Abschreibungen
EUR EUR EUR Wahrung Betrag % Wahrung Betrag
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching * 30.416.489,04 0,00 0,00 30.416.489,04 EUR 22.502.623,91 100,00% EUR -18.223.852,34
SUSS MicroOptics S.A., Hauterive, Schweiz 1.790.192,15 0,00 0,00 1.790.192,15 CHF 8.115.336,00 100,00% CHF 274.092,00
SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan 50.038,34 0,00 0,00 50.038,34 JPY -516.905.890,00 100,00% JPY -213.511.226,00
SUSS MicroTec Ltd., Coventry, Gro3britannien 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 GBP 1.151.154,41 100,00% GBP 15.766,16
SUSS MicroTec S.a.r.l., Pierre Bénite, Frankreich 67.151,79 0,00 0,00 67.151,79 EUR 965.975,83 100,00% EUR 86.184,00
SUSS MicroTec Inc., Sunnyvale, USA 23.010.289,78 0,00 -4.020.000,00 18.990.289,78 uUsD 20.162.069,92 100,00% uUsD -739.750,38
SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleitheim* 28.121,05 0,00 0,00 28.121,05 EUR 990.432,01 100,00% EUR 784.559,95
SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu, Taiwan 135.531,36 0,00 0,00 135.531,36 TWD 216.217.018,00 100,00% TWD 85.005.665,00
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai, China 190.240,65 0,00 0,00 190.240,65 CNY 32.177.591,25 100,00% CNY 5.679.384,02
SUSS MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur 12.725,88 0,00 0,00 12.725,88 SGD 618.276,81 100,00% SGD -464.113,88
SUSS MicroTec Korea Co Ltd., Seoul, Korea 28.436,14 0,00 0,00 28.436,14 KRW 2.084.513.221,00 100,00% KRW 1.121.855.551,00
SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co KG, Sternenfels 1,00 0,00 0,00 1,00 EUR 356.400,99 100,00% EUR 344.129,30
SUSS MicroTec Photomask Equipment Beteiligungs GmbH, Sternenfels 1,00 0,00 0,00 1,00 EUR 15.885,13 100,00% EUR 491,61
mittelbare Beteiligungen:
HUGLE Lithography Inc., San Jose, USA uUsD -39.579,00 53,00% usD -1.968,00
SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA USD -3.047.422,43 100,00% usD -6.783.485,22
Gesamt 57.179.218,18 0,00 -4.020.000,00 53.159.218,18

* Jahresiiberschuss / -fehlbetrag und Eigenkapital vor Ergebnisabflihrung

Im Jahresabschluss angewandte Umrechnungskurse:

2013

Bilanz
1EURvs 1USD 1,3767
1EURvs 1 JPY 144,5100
1EURvs 1 GBP 0,8331
1EURvs 1 CHF 1,2268
1EURvs 1 TWD 41,3366
1 EURvs 1 SGD 1,7391
1 EUR vs 1 CNY 8,4177
1 EUR vs 1 KRW 1.463,8900







SUSS MicroTec AG, Garching
Anhang fir das Geschéftsjahr 2013

Im Januar 2013 wurde das in den Konzessionen, gewerblichen Schutzrechten und &hnlichen Rechten
enthaltene geleaste SAP-System vollstidndig abgeschrieben. Der Restbuchwert zum 31.12.2012 betrug
EUR 73.919.

Zur Finanzierung des 2010 erworbenen Betriebsgrundstiicks in Sternenfels hat die SUSS MicroTec AG am
25./28. Mai 2010 einen Darlehensvertrag mit einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen belauft sich
auf EUR 4.500.000 und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Es wurde am 6. Juli 2010 valutiert und zur
Auszahlung gebracht. Zum 31.12.2013 betragt der Buchwert des Darlehens EUR 3.960.000.

Zur Finanzierung des 2013 neu erworbenen Betriebsgrundstiicks in Garching hat die SUSS MicroTec AG
am 23. / 28. Oktober 2013 einen Darlehensvertrag mit der IKB Deutsche Industriebank AG abgeschlossen.
Das Darlehen belauft sich auf EUR 7.500.000 und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021. Es wurde am
16. Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht. Zum 31.12.2013 betragt der Buchwert des
Darlehens EUR 7.500.000.

In 2013 bestanden keine Aktienoptionsplane mehr. Im Geschéaftsjahr 2012 wurden noch
14.510 Bezugsrechte aus Aktienoptionsplanen ausgeubt.

Das Gezeichnete Kapital betragt zum Bilanzstichtag EUR 19.115.538 und ist in 19.115.538 auf den Namen
lautende Stuckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von EUR 1,00 eingeteilt.

Am 31. Dezember 2013 verfugt die Gesellschaft Uber ein genehmigtes Kapital in Hohe von
EUR 9.000.000 (31.12.2012: EUR 9.052.863).

Kapitalriicklage und Jahresiiberschuss

In 2013 bestanden keine Aktienoptionspldne mehr. Im Geschéftsjahr 2012 wurden noch
14.510 Aktienoptionen ausgeubt. In diesem Zusammenhang wurden der Kapitalricklage im Vorjahr
EUR 4.353 zugefihrt.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag in Héhe von EUR -20.601.032,18 (2012:

Jahresiiberschuss EUR 7.594.741) erzielt. Die Kapitalriicklage betragt zum Bilanzstichtag insgesamt
EUR 82.157.254 (31.12.2012: EUR 82.157.254).

Die sonstigen Riickstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2013 31.12.2012
EUR EUR
Personalrickstellungen 637.902 1.108.511
Ausstehende Rechnungen 624.181 499.403
Jahresabschlusskosten 170.600 120.200
Aufsichtsratsverglitung 147.990 147.990
Erwerb 15% SMO, Bonus Purchase Price 360.021 346.168
Gesamt 1.940.694 2.222.272




SUSS MicroTec AG, Garching
Anhang fir das Geschéftsjahr 2013

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

.. | Restlaufzeit | Restlaufzeit
Restlaufzeit .
Gesamtbetrag |, . von 1 bis5 |von mehr als
bis zu 1 Jahr
Jahren 5 Jahren
EUR EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten gegenuber
Kreditinstituten 11.460.000 1.180.000 4.720.000 5.560.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 299.308 299.308 0] 0]
Verbindlichkeiten gegenuber
verbundenen Unternehmen 29.929.038 28.222.057 1.706.981 0
Sonstige Verbindlichkeiten 81.283 81.283 0
Gesamt 41.769.629 29.782.648 6.426.981 5.560.000

Die Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten betreffen zwei Darlehen zur Finanzierung der
Betriebsgrundstiicke in Garching und in Sternenfels. Fir jedes dieser Darlehen wurden Sicherheiten in
Form von Grundschulden gestellt

Die Risiken des variablen Zinssatzes des Darlehens Sternenfels werden durch einen Zinsswap eliminiert.
Die gegenlaufigen Wertveranderungen gleichen sich aus. Zum Stichtag betrug der nicht bilanzierte

Marktwert des Zinsswaps -344 TEUR (2012: -506 TEUR). Das Darlehen zur Finanzierung des
Betriebsgrundstiicks in Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

Umsatzerlose

Die Umsatzerlose betreffen die Weiterberechnung der bei der SUSS MicroTec AG entstandenen
Aufwendungen an die Unternehmen der SUSS Gruppe.

Aufgliederung der Umsatzerlose nach Tatigkeitsbereichen und Regionen:

Region verreannung | verechnung | verrachnumg |  SOnSige
EUR EUR EUR EUR
Deutschland 2.282.474 234.738 201.568 1.623.185
EU 56.112 2.331 1.933 19.337
Amerika 897.555 1.223 23.905 79.897
Japan 136.417 14.646 6.985 0
Asien 462.829 855 14.076 184.870
Sonstige 183.773 -1.894 6.824
Gesamt 4.019.160 251.899 255.291 1.907.289
Die unter der Spalte ,Sonstige ausgewiesenen Umsatzerlése enthalten im Wesentlichen die

Weiterbelastung von SAP Aufwendungen in Héhe von EUR 1.262.869 sowie die Weiterbelastung von
Lizenzgebuhren in Héhe von EUR 303.785.



SUSS MicroTec AG, Garching
Anhang fir das Geschéftsjahr 2013

Sonstige betriebliche Ertrage

Im Wesentlichen ist diese Position durch Fremdwahrungsgewinne in Hohe von EUR 1.519.880,75 (2012:
EUR 1.894.696) und durch Mieterlése in Hohe von EUR 1.464.352,83 (2012: EUR 1.108.847) gepragt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Rechts- und Beratungskosten, Instandhaltungskosten und
sonstige Verwaltungskosten. Im Vorjahr beinhaltete diese Position Fremdwahrungsverluste in Hohe von
EUR 1.450.025,10.

Ertrage aus Gewinnabfiihrungsvertragen

Die ausgewiesenen Ertrage resultieren aus dem am 24. Aprii 2008 abgeschlossenen
Ergebnisabflihrungsvertrag mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleil3heim.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermoégens

Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen auf Finanzanlagen in Hohe von EUR 5.611.742,07 (2012: EUR
568.958) erfasst. Davon entfielen EUR 1.591.742,07 (2012: EUR 568.598) auf Ausleihungen an
verbundene Unternehmen in Fremdwahrung, die allein aufgrund von Wechselkursveranderungen
vorgenommen wurden. Dartber hinaus wurde der Beteiligungsbuchwert der SUSS MicroTec, Inc.,
Sunnyvale (USA) im Berichtsjahr um EUR 4.020.000,00 wertberichtigt. Die Konzernplanung sieht bei der
SUSS MicroTec, Inc. einen leicht wachsenden Umsatz fir die kommenden Jahre vor. Allerdings wird die
Gesellschaft zukiinftig — aufgrund der Anderung des Geschaftsmodells der SUSS MicroTec, Inc. — lediglich
eine fir eine Vertriebsgesellschaft tibliche EBIT-Marge erzielen. Entsprechend zeigt das zur Uberpriifung
der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an
dieser Gesellschaft um rund TEUR 4.020 an.

Aufwendungen aus Verlustiibernahme

Die ausgewiesenen Aufwendungen aus Verlustibernahme resultieren aus dem seit 01.01.2011 glltigen
Ergebnisabflihrungsvertrag mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching.

D. Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten

Derivative Finanzinstrumente werden innerhalb der SUSS MicroTec AG zum Zweck der Absicherung von
Zinsanderungsrisiken fur ein Immobiliendarlehen eingesetzt. Dariber hinaus schliet die Gesellschaft
Wahrungstermingeschafte ab. Sofern die Voraussetzungen erfiillt sind, werden Finanzinstrumente mit dem
abgesicherten Grundgeschaft zu einer Bewertungseinheit zusammengefasst.

Bei der Bildung von Bewertungseinheiten werden die Zahlungsstrome aus dem Grund- und
Sicherungsgeschéft einander gegeniibergestellt und nur ein negativer Uberhang aus dem ineffektiven Teil
der Marktwertveranderungen zuriickgestellt. Die unrealisierten Gewinne und Verluste aus dem effektiven
Teil gleichen sich vollstandig aus und werden weder bilanziell noch ergebniswirksam erfasst.

Die Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten, fir die keine Bewertungseinheit mit dem
Grundgeschaft gebildet wird, erfolgt dagegen imparitatisch. Somit werden fir negative Marktwerte
Ruckstellungen gebildet, positive Marktwerte werden nicht angesetzt.

Derivative Finanzinstrumente mit Bildung von Bewertungseinheiten

Das im Geschéftsjahr 2010 aufgenommene Darlehen, das der Finanzierung des Grundstiicks in Sternenfels
dient, weist einen variablen Zins aus. Zur Absicherung des Zinsanderungsrisikos wurde ein
laufzeitkongruenter Zinsswap abgeschlossen.



SUSS MicroTec AG, Garching
Anhang fir das Geschéftsjahr 2013

Die Hohe des Grundgeschafts (Darlehensvertrag) sowie der Nennbetrag des Zinsswaps beliefen sich bei
Abschluss des Sicherungsgeschéfts auf 4,5 Mio. €. Darlehensvertrag und Zinsswap weisen eine Laufzeit
bis zum 30. Juni 2020 auf. Der Nennbetrag des Zinsswaps reduziert sich analog zum Darlehensbetrag, von
dem jahrlich 180 TEUR getilgt werden, und entspricht somit wahrend der gesamten Laufzeit dem
Nennbetrag des Grundgeschéfts. Mit dem Zinsswap wird der variable Zins des Darlehens getauscht gegen
einen fixen Zinssatz. Nach Absicherung durch den Zinsswap ergibt sich aus dem Darlehen (synthetisch) ein
fester Zinssatz von 3,98 %.

Zum Stichtag betragt der nicht bilanzierte Marktwert des Zinsswaps EUR -343.864,93 (2012: EUR -
506.268).

Derivative Finanzinstrumente ohne Bildung von Bewertungseinheiten

Die SUSS MicroTec AG schlieRt bei Bedarf Wahrungstermingeschéfte ab, um das Wechselkursrisiko
aufgrund eingehender Zahlungen aus Warenlieferungen und Darlehenstilgungen in japanischen Yen und
US-Dollar abzusichern.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine offenen Termingeschafte.

E. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen

Die SUSS MicroTec AG mit Sitz in Garching ist Konzernobergesellschaft.

Beziglich der Angaben zu den Konzerngesellschaften verweisen wir auf unsere Ausfihrungen im Abschnitt
C.

F. Sonstige Angaben

Der Vorstand der Gesellschaft setzte sich im Geschéftsjahr 2013 wie folgt zusammen:
Frank Averdung, Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender

Zustandigkeitsbereiche: Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Arbeitssicherheit,
Qualitdtsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie, Investor
Relations

weitere Mandate: VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main (Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender)
VDMA (Mitglied im Hauptvorstand)
Semi European Advisory Board (Mitglied)

IMS Nanofabrication AG, Wien (Mitglied des Aufsichtsrats)

Michael Knopp, Diplom-Kaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands

Zustandigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen,
Personal, Facility Management, Materialwirtschaft und Logistik

weitere Mandate: keine
Die Beziige des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Verglitung erhalten die

Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschiisse zur Sozialversicherung sowie einen Firmen-
wagen mit privater Nutzungsmaglichkeit.
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Als variable Vergltung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell
festgelegten Zielen orientiert.

Im Berichtsjahr wurden an Herrn Averdung und Herrn Knopp keine Bezugsrechte auf Aktien der

Gesellschaft ausgegeben.

Fir Pensionsverpflichtungen gegentber einem ehemaligen Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestand
2012 eine Pensionsrickstellung in Héhe von EUR 34.902, die Mitte des Jahres 2013 ausbezahlt wurde.

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr wie folgt zusammengesetzt:

Dr. Stefan Reineck, Kirchardt, Geschaftsfliihrender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management &
Consulting GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender

weitere Mandate: AttoCube Systems AG, Miinchen (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im Board of
Directors)

Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
ASW Group AG, Heilbronn (Mitglied im Aufsichtsrat)

Jan Teichert, Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar; stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats

weitere Mandate: ab 1. Januar 2014 Kolb Technology GmbH, Hengersberg (Mitglied des Beirats)

Gerhard Pegam, Au bei Bad Aibling, Geschaftsfihrender Gesellschafter der GPA Consulting GmbH;
Aufsichtsratsmitglied

Weitere Mandate: OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
Schaffner Holding AG, Solothurn/CH (Mitglied des Verwaltungsrats)

Vergiitung Vorstand und Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Vorstands erhielten eine Barvergitung in Hohe von EUR 793.448 (2012: EUR
1.252.594).

Die Vergutung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug einschlieBlich Sitzungsgelder und
Aufwandsentschadigungen EUR 160.435 (2012: EUR 160.678).

Individualisierte Angaben zur Vergiitung des Vorstands und des Aufsichtsrates sind im Vergutungsbericht,
der Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt.
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Der Aktienbesitz des Vorstands und des Aufsichtsrats setzt sich flir das Geschéftsjahr 2013 wie folgt
zusammen:

Aktienbesitz der Organmitglieder Aktienanzahl Bezugsrechte
31.12.2013 31.12.2012( 31.12.2013 31.12.2012
Frank Averdung 90.540 83.200 0 0
Michael Knopp 28.100 22.500 0 0
Dr. Stefan Reineck 9.600 9.600 0 0
Jan Teichert 0 0 0 0]
Gerhard Pegam 0 0 0 0

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der SUSS MicroTec AG fir das Geschéftsjahr 2013 werden im
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Die SUSS MicroTec AG stellt in Anwendung von § 315a HGB einen Konzernabschluss nach IFRS auf. Der
Konzernabschluss und Konzernlagebericht fiir das Geschaftsjahr 2013 werden im elektronischen Bundes-
anzeiger bekannt gemacht.

G. Latente Steuern

Nach dem Temporary-Konzept in der Ausgestaltung des BilMoG werden die latenten Steuern flr
Differenzen zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansatzen flr alle Bilanzposten ermittelt. Die
aktiven latenten Steuern sind im Wesentlichen auf unterschiedliche Ansatze im Bereich der Anteile an
verbundenen Unternehmen und der Ausleihungen an verbundene Unternehmen sowie auf den
Verlustvortrag zurlickzufiihren. Die passiven latenten Steuern entfallen im Wesentlichen auf
unterschiedliche Ansatze im Rahmen der Fremdwahrungsbewertung.

Da die SUSS MicroTec AG als Organtragerin auch Steuerschuldnerin fiir die verbundenen Unternehmen
ist, mit denen ein Ergebnisabfiihrungsvertrag besteht, werden bei der Ermittlung der latenten Steuern auch
deren Differenzen beriicksichtigt. Die SUSS MicroTec AG ist auBerdem als Mitunternehmer an einer
Personengesellschaft beteiligt. Die latenten Steuern auf die Differenz zwischen den handels- und
steuerrechtlichen Wertanséatzen, sind, soweit es die Kérperschaftsteuer betrifft, ebenfalls bei der SUSS
MicroTec AG auszuweisen. Auf Organgesellschaftsebene flhren die Differenzen zu einem leichten
Uberhang an passiven latenten Steuern.

Die Ermittlung der latenten Steuern auf die o.g. Differenzen erfolgt mit einem durchschnittlichen
Ertragsteuersatz von 28,25 % bzw. 15,83 %. Nach der Verrechnung der aktiven und passiven latenten
Steuern verbleibt ein aktiver Uberhang, der gemaR dem Ansatzwahlrecht nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB
nicht aktiviert wurde.

H. Honorare des Abschlusspriifers

Wir verweisen bezuglich der Honorare des Abschlussprifers gemall § 285 Nr.17 HGB auf den
Konzernabschluss der Gesellschaft.
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. Zahl der Beschiftigten

Die SUSS MicroTec AG hatte im Geschéftsjahr 2013 durchschnittlich 20 Arbeitnehmer (2012: 20), davon,
wie im Vorjahr, 12 mannliche und acht weibliche. Es handelt sich um Mitarbeiter im Verwaltungsbereich.

J. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhéltnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Durch den Erwerb des Betriebsgrundstiicks in Garching entfallen die Mietverpflichtungen gegeniber der
SUSS MicroTec Lithography GmbH. Es bestehen Leasingverpflichtungen in Hohe von EUR 77.339
gegeniber Dritten bis zum Jahr 2016. Die finanzielle Restverpflichtung fiir den abgeschlossenen Sale and
Lease Back Vertrag fir das implementierte SAP-System in Hoéhe von EUR 77.055 ist im Januar 2013
erloschen.

Verbindlichkeiten aus Biirgschaften

Die von dem Bankenkonsortium unter Fihrung der BayernLB und unter Beteiligung der Deutschen Bank
AG sowie der DZ Bank AG bereitgestellte Kredit- und Avallinie in Hohe von EUR 7,5 Mio. lief bis zum 31.
Marz 2013.

Zum 1. April 2013 haben die SUSS MicroTec AG und die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit dem
Bankenkonsortium neue Kreditvertrage abgeschlossen. Mit den neuen Kreditvertragen wurden Kredit- und
Avallinien von insgesamt EUR 4,5 Mio. vereinbart. Die neuen Kreditlinien wurden bis auf weiteres gewahrt
und wurden ohne Covenants gestellt. Sie dienen in erster Linie der Unterlegung von
Anzahlungsbiirgschaften. Die SUSS MicroTec AG hat sich fiir eine Reduzierung der Avallinien entschieden,
da die bisher zur Verfiigung stehenden Linien nicht ausgeschépft wurden.

Es besteht wie bereits im Vorjahr eine Rickbirgschaft flir einen Kautionsversicherungsvertrag der
Tochtergesellschaften SUSS MicroTec Lithography GmbH und SUSS MicroTec REMAN GmbH. Der
Blrgschaftsrahmen dieses Kautionsversicherungsvertrages belduft sich auf EUR 2,5 Mio. Der
Kautionsversicherungsvertrag lauft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie hat die SUSS MicroTec AG
ein Festgeldkonto bei der UniCredit (HVB) in H6he von EUR 350.000 an die Versicherungsgesellschaft
abgetreten.

Zum Bilanzstichtag sind die Linien in Héhe von TEUR 3.171 (Vorjahr: T€ 1.913) in Form von Avalen
genutzt. Zur Sicherung der Kredit- und Avallinien bei dem bestehenden Bankenkonsortium wurde der
Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der SUSS MicroTec Lithography GmbH
abgetreten.

Gewabhrleistungsvertrage

Im Mai 2010 hat die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co.KG mit der BW Bank Mannheim
einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Hohe von EUR 1 Mio. gestellt wird.
Die Kreditlinie Iauft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SUSS MicroTec AG hat
zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklarung fir die SUSS MicroTec Photomask
Equipment GmbH & Co.KG abgegeben.

Fir die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortfihrung der SUSS MicroTec (Singapore) Pte Ltd.,
Singapur, besteht wie bereits im Vorjahr eine Garantieerklarung, die ihre Giiltigkeit behalt solange sie nicht
widerrufen wird.

Far die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortfihrung der SUSS MicroTec S.a.r.l., Frankreich,
besteht wie bereits im Vorjahr eine Garantieerklarung, die ihre Gultigkeit behalt solange sie nicht widerrufen
wird.



SUSS MicroTec AG, Garching
Anhang fir das Geschéftsjahr 2013

Im Vorjahr bestand fir die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortfiihrung der SUSS MicroTec KK,
Japan, eine Garantieerklarung, die zum 25. Januar 2013 ausgelaufen ist. Es wurde eine weiterfihrende
Garantieerklarung flr den Zeitraum von einem Jahr bis zum 17. Januar 2014 abgegeben.

Aufgrund der nachhaltig positiven Ertragslage der Gesellschaften rechnen wir nicht mit einer
Inanspruchnahme aus den abgegebenen Garantien und Patronatserklarungen.

K. Mitteilungen nach WpHG

Im Geschéftsjahr wurden gegeniiber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemafl § 21 Abs. 1 WpHG
i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Die DWS Invest SICAV, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemafl} § 21 Abs. 1 WpHG am 19. August 2013
mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. August
2013 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,92 % betragt (557.233 Stimmrechte).

Die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemaf § 21 Abs. 1 WpHG am 23.
August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am
23. August 2013 die Schwelle von 5% und gleichzeitig die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu
diesem Tag 0% betragt (0 Stimmrechte).

Die UBS AG, Zurich, Schweiz, hat uns gemafl § 21 Abs. 1 WpHG am 26. August 2013 mitgeteilt, dass ihr
Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. August 2013 die Schwellen
von 3% und 5% Uberschritten hat und zu diesem Tag 9,98 % betragt (1.907.818 Stimmrechte). Davon sind
ihr 0,02 % (3.322 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zirich, Schweiz, hat uns gemal § 25a WpHG am 26. August 2013 mitgeteilt, dass ihr
Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. August 2013 die Schwellen
von 5% und 10% Uuberschritten hat und zu diesem Tag 10,57 % betragt (2.021.180 Stimmrechte). Davon
sind ihr 9,98 % (1.907.818 Stimmrechte) nach § 21 bzw. § 22; 0,58% (111.574 Stimmrechte) nach § 25a
WpHG und 0,01% (1.788 Stimmrechte) nach § 25 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zurich, Schweiz, hat uns gemall § 25 WpHG am 26. August 2013 mitgeteilt, dass ihr
Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. August 2013 die Schwelle
von 5% uberschritten hat und zu diesem Tag 9,99 % betragt (1.909.606 Stimmrechte). Davon sind ihr 9,98
% (1.907.818 Stimmrechte) nach § 21 bzw. § 22 und 0,01% (1.788 Stimmrechte) nach § 25 WpHG
zuzurechnen.

Die UBS AG, Zirich, Schweiz, hat uns gemal § 25a WpHG am 27. August 2013 mitgeteilt, dass ihr
Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 22. August 2013 die Schwelle
von 10% unterschritten hat und zu diesem Tag 9,96 % betragt (1.903.098 Stimmrechte). Davon sind ihr
9,35 % (1.787.630 Stimmrechte) nach § 21 bzw. § 22; 0,59% (113.680 Stimmrechte) nach § 25a WpHG
und 0,01% (1.788 Stimmrechte) nach § 25 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zirich, Schweiz, hat uns geman § 21 Abs. 1 WpHG am 05. September 2013 mitgeteilt, dass
ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 02. September 2013 die
Schwellen von 5% unterschritten hat und zu diesem Tag 4,65 % betragt (889.826 Stimmrechte). Davon sind
ihr 0,02 % (3.322 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Ziirich, Schweiz, hat uns gemaR § 21 Abs. 1 WpHG am 13. September 2013 mitgeteilt, dass
ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 10. September 2013 die
Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,92 % betragt (557.992 Stimmrechte). Davon sind
ihr 0,02 % (3.322 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die Schroders PLC, London, GroRbritannien, hat uns gemal § 21 Abs. 1 WpHG am 04. Oktober 2013
mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 02. Oktober
2013 die Schwelle von 3% Uberschritten hat und zu diesem Tag 3,11 % betragt (594.407 Stimmrechte).
Davon sind ihr 3,11 % (594.407 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22
Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.
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Die Schroder Administration Limited, London, GrofR3britannien, hat uns gemafl § 21 Abs. 1 WpHG am 04.
Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am
02. Oktober 2013 die Schwelle von 3% uberschritten hat und zu diesem Tag 3,11 % betragt (594.407
Stimmrechte). Davon sind ihr 3,11 % (594.407 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in
Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroder Investment Management Ltd, London, GroRbritannien, hat uns gemaf § 21 Abs. 1 WpHG am
04. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland,
am 02. Oktober 2013 die Schwelle von 3% Uberschritten hat und zu diesem Tag 3,11 % betragt (594.407
Stimmrechte). Davon sind ihr 3,11 % (594.407 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in
Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Der Vanguard Whitehall Funds, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemaR § 21 Abs. 1 WpHG am 09.
Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am
03. Oktober 2013 die Schwelle von 3% Uberschritten hat und zu diesem Tag 3,196 % betragt (611.000
Stimmrechte).

Die Henderson Group Plc, London, UK, hat uns gemaR § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Januar 2014 mitgeteilt,
dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die
Schwelle von 5% Uberschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % betragt (982.355 Stimmrechte). Davon sind
ihr 5,13% (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2
zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3% oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund —
Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Der Henderson Horizon Fund — Pan European Smaller Companies Fund, London, UK, hat uns gemag § 21
Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG,
Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 3% Uberschritten hat und zu diesem Tag
3,17 % betragt (606.922 Stimmrechte).

Die Henderson Global Investors (Holdings) PLc, London, UK, hat uns gemaRl § 21 Abs. 1 WpHG am 24.
Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am
23. Januar 2014 die Schwelle von 5% uberschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % betragt (982.355
Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13% (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in
Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3% oder
mehr direkt von der Henderson Horizon Fund — Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemaR § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar
2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23.
Januar 2014 die Schwelle von 5% uberschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % betragt (982.355
Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13% (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG
zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3% oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund —
Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Baillie Gifford & Co, Edinburgh, UK, hat uns gemaf § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Februar 2014 mitgeteilt,
dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 26. Februar 2014 die
Schwelle von 3% Uberschritten hat und zu diesem Tag 3,003 % betragt (574.032 Stimmrechte). Davon sind
ihr 1,275% (243.632 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,728% (330.400
Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG sowie § 22 Abs. 1 Satz 2 (via Baillie Gifford Overseas
Limited) zuzurechnen.

L. Angabe der Erklarung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Januar 2013 eine Entsprechenserklarung
gemal §161 AktG abgegeben und erklart, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 mit vier Ausnahmen - Einladung zur
Hauptversammlung, Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen, Bildung von Ausschiissen und Benennung von
Zielen fur die Zusammensetzung des Aufsichtsrats — entsprechen werden und den Empfehlungen des
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Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 seit der Abgabe der letzten jahrlichen Entsprechenserklérung im
Mai 2012 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Im Januar 2014 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechenserklarung geméa § 161 AkiG
abgegeben und erklart, dass sie den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate-
Governance-Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 mit folgenden Ausnahmen — Selbstbehalt bei der
D&O-Versicherung, Vertikaler Vergitungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschissen und
Ziele fur die Zusammensetzung des Aufsichtsrats — entsprechen werden. Ferner haben Vorstand und
Aufsichtsrat erklért, dass sie den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom vom 15. Mai 2012 seit der
Abgabe der letzten jahrlichen Entsprechenserkldarung im Januar 2013 mit den darin angegebenen
Ausnahmen entsprochen haben.

Die Entsprechenserklarungen wurden im Internet unter www.suss.com dauerhaft zuganglich gemacht.

Garching, 10. Marz 2014

o

Frank Averdung Migha ’@p
Vorsitzender des Vorstandes % and
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Historische Anschaffungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
1.1.2013 Zugange Umgliederungen Abgange 31.12.2013 1.1.2013 Zugange Abgange 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012
€ € € € € € € € € € €
.  Immaterielle Vermégensgegenstinde
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.918.825,86 338.138,67 0,00 3.763.822,66 3.493.141,87 5.398.645,50 533.725,54 3.762.922,54 2.169.448,50 1.323.693,37 1.520.180,36
2. Geleistete Anzahlungen 0,00 85.300,07 0,00 0,00 85.300,07 0,00 0,00 0,00 0,00 85.300,07 0,00
6.918.825,86 423.438,74 0,00 3.763.822,66 3.578.441,94 5.398.645,50 533.725,54 3.762.922,54 2.169.448,50 1.408.993,44 1.520.180,36
Il. Sachanlagen
1. Grundstiicke, grundstiicksahnliche Rechte und Bauten
einschlieBlich der Bauten auf fremden Grundstlcken 5.162.760,69 9.186.705,17 111.889,80 0,00 14.461.355,66 431.364,57 230.395,30 0,00 661.759,87 13.799.595,79 4.731.396,12
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 145.746,94 1.447,35 0,00 147.194,29 0,00 3.286,94 3.286,94 143.907,35 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 1.065.321,77 280.719,62 0,00 171.116,01 1.174.925,38 654.912,88 203.870,79 171.116,01 687.667,66 487.257,72 410.408,89
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 113.337,15 0,00 -113.337,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.337,15
6.341.419,61 9.613.171,73 0,00 171.116,01 15.783.475,33 1.086.277,45 437.553,03 171.116,01 1.352.714,47 14.430.760,86 5.255.142,16
lll. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 74.997.031,65 0,00 0,00 0,00 74.997.031,65 17.817.813,47 4.020.000,00 0,00 21.837.813,47 53.159.218,18 57.179.218,18
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 13.429.983,31 8.067.283,24 0,00 0,00 21.497.266,55 568.957,61 1.591.742,07 0,00 2.160.699,68 19.336.566,87 12.861.025,70
88.427.014,96 8.067.283,24 0,00 0,00 96.494.298,20 18.386.771,08 5.611.742,07 0,00 23.998.513,15 72.495.785,05 70.040.243,88
101.687.260,43 18.103.893,71 0,00 3.934.938,67 115.856.215,47 24.871.694,03 6.583.020,64 3.934.038,55 27.520.676,12 88.335.539,35 76.815.566,40
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Geschaft und Rahmenbedingungen

GESCHAFTSTATIGKEIT UND GESCHAFTSFELDER

Der SUSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen fir die
Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von
Systemldsungen fur die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner
der Halbleiterindustrie fir den Labor- und den Produktionsbereich tatig.
Wachstumsstarke Spezialmarkte bilden die Tatigkeitsschwerpunkte und fordern die
innovative  Technologieentwicklung mit langfristigem  Erfolgspotenzial  fur
zukunftsorientierte Markte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und
Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der
Telekommunikation und der optischen Datenibertragung. Grof3ere Prozesslinien
bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeraten, wo die Gruppe mit internen und
externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und
nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2013 in vier Segmente eingeteilt, wobei das
Segment ,Sonstige” aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils
getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG
(nach Umfirmierung: SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG) wurde
im Geschaftsjahr 2010 ein neues Segment — Fotomasken Equipment — geschaffen.
Die im Marz 2012 akquirierte Tamarack Scientific Co., Inc. (nach Umfirmierung:
SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) ist im Segment Lithografie angesiedelt.

Konzernholding

............................................................................................................... .

Segment Substrat
Bonder

Segment Fotomasken

. Segment Lithografie
Eauioment 9 g

Segment Sonstige

Mikrooptik
CANP

Konzernholding

RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der
SUSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der
Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften.
In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstatigkeiten
oder auch lokale Vertriebs- und Servicetétigkeiten flir den Konzern organisiert. Die
Gruppe verfugt Uber Standorte in Deutschland, den USA, GroRRbritannien, Frankreich,
der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.



Daneben besteht noch eine geringflugige Beteiligung von zehn Prozent an der
ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT). Diese geringfligige Beteiligung hat nur
unwesentliche Bedeutung flr das operative Geschatft.

sUSS MicroTec AG
Garching (DE}

SUSS MicraTec |ithography Gmbll | 100% 100% SUSS MicraTac (Taiwan)
Garching (DLC) - = Company Ltd, Hsin Chu (TWV)
53, 1%
HUGI F | ithography Ine, 100% SUSS MicroTec
San José (1S) " Company Ltd, Shanghai (CN)
SUSS MiciuTec Pholumask 100% 100% > 5USS Microlec Korea
Equipmenl GmbH & Co. KG -— Cumipany Lid, Seoul {ROK)
Sternenfe's (MF)
0% ) 100% o SUSS MicraTec KK,
SUSS MicroTec Photomask — 0% Yokohama (JP)
Equipment Beteiligungs GmbH,
Sternenfels (DE) 108%  |S1SS MicmTer (Singapare) Ple 1td,
Singzpur (SGH)
SUSS MicrnTer Reman GmbH, 100%
b =il { .
Oserschlzitheim (D) 100% . SUSS MicraTec Lid.,
Coventry (GD)
3185 MicraOptics S A 100% )
Hautorie (CH) e SUSS MisraTac Sarl |
— v Pierre Nénite (TR)
100%
SUSS MicroTee Photonic 100% SUSS MiciuTed, lnc.,

Systems Inc.. Corcna (US) N Sin iy (L)

Froduction

Sales

Other/Non operating

LEITUNG UND KONTROLLE

Vergutungsstruktur fur die Organmitglieder

Der Vorstand erhalt fir seine Tatigkeit eine monatliche Festvergitung sowie eine
variable Vergutung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In
den Festbeziigen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit
privater Nutzungsmoglichkeit und Zuschisse zur Krankenversicherung sowie zur
freiwilligen Rentenversicherung. Die Hohe der Festbeziige wird in erster Linie von
der Ubertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des
Vorstands sind zuséatzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen
gemacht worden. Die variable Vergltung enthalt kurzfristige und auch langfristige
Komponenten, nédhere Hinweise hierzu sind im Vergutungsbericht zu finden.

Die Vergutung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SUSS MicroTec AG
geregelt. Gemal § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende
Vergutung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500 €
pro Sitzung erhalt jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergtltung, die sich an der
Verantwortung und dem Tatigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert.
Demnach erhéalt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000 €, sein Stellvertreter
40.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 € pro Geschaftsjahr als
feste Vergltung.



Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang,
Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfahigkeit der
Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der
Rohertragsmarge (Umsatz abzuglich der Herstellungskosten) sowie des
Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthalt
auch Ertrdge und Aufwendungen aus der Fremdwahrungsumrechnung und aus
Anlagenabgangen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem
operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquiditat (flussige Mittel zuztglich
verzinslicher Wertpapiere und abzlglich Finanzschulden), die eine wesentliche
Steuerungsgrol3e fur die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SUSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmarkte in der Industrie der
Halbleiterausruster als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets
innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Markten zu agieren. Partnerschaften
mit fuhrenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass
wesentliche Trends oder zukunftstrdchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt
und auf deren Potenziale fiir SUSS MicroTec berpriift werden. Im Vordergrund steht
dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller
Komplementarprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

Im Folgenden haben wir eine Ubersicht (ber die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitdten 2013 nach Segmenten zusammengestellt.

LITHOGRAFIE
Das grofite Segment, die Lithografie, vereinigt die Produktlinien Exposure (Mask
Aligner, UV-Projektionsgerate), Laser Processing und die Coater/Developer.

Im Bereich der Belackungs- und Entwicklungssysteme hat SUSS MicroTec die
neueste Generation der 200 mm Plattform fir die Volumenproduktion um eine
wesentliche Komponente erweitert. Das neue vierfach Ein-/Ausgabemodul erlaubt
das kontinuierliche Prozessieren von zwei parallelen Prozessen ohne Unterbrechung.
Die modulare Ausbauféahigkeit mit diesem Modul ermdglicht eine weiterfihrende
Optimierung der Cost of Ownership der Coater/Developer Cluster. Der
unterbrechungsfreie Betrieb erh6ht zudem die Prozesssicherheit und die Ausbeute.

Plattformibergreifend, hinsichtlich der 200 mm und 300 mm Coater/Developer
Cluster, wurden weitere Themen zur Erh6hung der Prozesssicherheit und Stabilitat
umgesetzt. Die Entwicklungen eines geschlossenen Regelkreises zur Dispense Arm
Positionierung ermoglicht eine hohe Zuverlassigkeit bei der Entlackung des
Randbereiches eines Substrates. Die betroffene Flache kann auf ein Minimalmaf3
reduziert werden und somit die aktiv nutzbare Flache, gleichbedeutend mit Ausbeute,
erh6ht werden. In einem weiteren Projekt wurde die Ausfihrung der temperierten
Medienversorgung der Entwicklermodule Uberarbeitet. So ist nun eine geringere
Toleranz sowie ein erweiterter einstellbarer Bereich der Temperatur mdglich. Dies



bietet Verbesserungen sowohl hinsichtlich der Prozesszeiten, als auch der
Prozesssicherheit. Die neuen Module ermdglichen zudem eine flexible Anordnung
der Temperiertechnik, auch weit entfernt zu den Prozessanlagen.

Die Fahigkeit der 300 mm Maschinen wurde dahingehend erweitert, bei nur
geringflgig gestiegenen Kosten Substrate zu prozessieren, die eine Uber das
Standardmal? hinausgehende Flache bieten. Hierfir wurden alle Module, vom
Spincoater, uber die Hot- und Coolplates bis hin zu dem Entwickler konstruktiv
Uberarbeitet.

In der Produktlinie Mask Aligner wurde die Steuerungsplattform durch eine Soft- und
Hardwarelberarbeitung zur Modernisierung der Bedienungskonzepte weiter
entwickelt. Im Jahr 2013 wurden bereits die ersten Ergebnisse der Uberarbeitung in
neuen Maschinen umgesetzt. Die Weiterentwicklung, welche grundsatzlich auf alle
Mask Aligner-Typen zielt, wurde im letzten Jahr zuerst bei der MA200Compact
eingesetzt.

Die Ingenieure von SUSS MicroTec arbeiten permanent an einer Verbesserung der
Prozessfahigkeit der Maschinen. Ein wichtiger Entwicklungsschritt hierbei ist die
Neu- und Weiterentwicklung der Werkzeuge (Toolings), zum Beispiel fur die
Verarbeitung ungewodhnlicher Substrate vor allem im MEMS-Bereich. Diese
Neuerungen verbessern die Vermarktungsmdoglichkeiten in einem durch die
Vielseitigkeit der Prozesse und Substrate gekennzeichnetem Technologiebereich.
Bei den Produktionsalignern MA200 Compact, MA300, MA150e wurde die
Automatisierung sowie die Einbettung in  Fab-Automatisierungssysteme
weiterentwickelt. Damit tragt SUSS MicroTec den steigenden Anforderungen
hinsichtlich Automatisierung und Wafertracking in den Hochvolumenmarkten
Rechnung.

SUSS MicroTec Photonic Systems entwickelt und fertigt UV-Projektionsscanner
sowie Excimer-Laser-Stepper. Diese Maschinen sind hochkomplex und die
Entwicklung neuer Maschinengenerationen erstreckt sich tber einen vergleichsweise
langen Zeitraum. Im Geschaftsjahr 2013 wurden sowohl die Projektionsscanner als
auch die Excimer-Laser-Stepper weiter entwickelt und die jeweils neue
Maschinengeneration wird im Verlauf des ersten Halbjahres 2014 in den Markt
eingefuhrt werden. Bei den Neuerungen geht es im Wesentlichen darum, die
Anforderungen moderner Packaging-Technologien in der Volumenproduktion zu
adressieren.

SUBSTRAT BONDER

Das Segment Substrat Bonder konnte im Geschaftsjahr 2013 einen Folgeauftrag fur
die neueste Generation von Produktions-Bondclustern verbuchen. Der Kunde, der
bereits 2012 erste Gerate von SUSS MicroTec installiert hat, plant mit den neu
bestellten Systemen in die Vorserienproduktion einzusteigen. Fiur diese Maschinen
wurden zahlreiche Neu- und Weiterentwicklungen durchgefihrt, dazu gehdort unter
anderem die kontinuierliche und konsequente Verbesserung der Hardware und
Software fur die Anforderungen in der Massenproduktion. Die Fahigkeit, Anlagen in
die Fab-Automation auf Kundenseite einbinden zu konnen ist flur die
Volumenfertigung unablassig. Daneben wurde an der Verbesserung des
Durchsatzes und der vollautomatischen Beladung fir Wafer und Tapeframe
Loadports gearbeitet.



In Zusammenarbeit mit einem externen Partner wurde der Prototyp eines
kostengunstigen Excimer-Laser-Debonders entwickelt. Der Excimer-Laser-Debonder
wird fur die Entwicklung von neuartigen, temporaren Bondprozessen fiur Interposer-
und 3D Anwendungen eingesetzt. Die Prozessentwicklung fand in Kooperation mit
verschiedenen Materialherstellern statt. Im Geschéaftsjahr 2013 wurde dartber hinaus
ein neuartiger Bonder fur Fusions- und Hybrid-Bondprozesse auf Basis der XBS300
Gen2 Plattform fertig gestellt und im Rahmen eines gemeinsamen
Entwicklungsprogrammes bei einem filhrenden europaischen Forschungsinstitut
installiert.

FOTOMASKEN EQUIPMENT

Immer kleinere Strukturen und eine immer héhere Integrationsdichte verlangen stets
die Erweiterung bestehender als auch die Entwicklung neuer Lithografie-
Technologien im Halbleiter-Frontend. Die 193nm Immersionslithografie, basierend
auf der Verwendung optischer Transmissionsmasken sowie die EUV-Lithografie, die
hochempfindliche reflektierende Masken verwendet, sind dabei die beiden
Technologien, die die Entwicklungen im Markt vorantreiben. Infolgedessen missen
auch die damit unmitteloar verknipften Verfahrenstechniken wie die
Fotomaskenreinigung, eine der Kernkompetenzen von SUSS MicroTec, angepasst
werden.

Im Jahr 2013 lag ein wesentlicher Focus auf der Evaluierung von Methoden zur
Verbesserung der Sauberkeit der Rickseite von EUV Masken wahrend des
Fotomaskenreinigungsprozesses. Neben der Optimierung der Reinigungsapplikation
an sich, wurde der Einsatz von verschiedenen Materialien und Geometrien flr den
Fotomaskensubstrathalter (Chuck) in der Reinigungskammer untersucht. Wahrend
bei dem vorherigen Chuck kleinste Partikel herausgelost wurden und sich teilweise
auf der Fotomaskenriickseite abgesetzt hatten, konnte mit einer neuartigen Chuck-
Variante die intrinsische Reinheit auf ein Maximum angehoben werden. Hinzu kam,
dass durch die Materialauswahl der Chuck wesentlich filigraner und mit reduzierten
Storkanten geformt werden konnte, wodurch wiederum die Effizienz der
Ruckseitenspulung wahrend der Reinigung gesteigert wird.

Das im Jahre 2012 in das MaskTrack Pro InSync System integrierte
Rickseiteninspektionsgerat, wodurch ein weiterer wesentlicher Schritt zur
Unterstitzung der gesamten EUVL-Infrastrukture und —logistik geschaffen wurde,
wird mit einer von SUSS MicroTec eigens entwickelten Software unterstiitzt. Diese
erlaubt die Bewertung der ermittelten Defektdaten und automatisiert eine ggf.
notwendige weitere Reinigung des Substrates. Im vergangenen Jahr wurde im
Rahmen eines Projektes mit einem grof3en Chiphersteller diese Defektdatenanalyse
(SW) weiter ausgebaut, die eine detaillierte Klassifizierung der Daten aufgrund ihrer
GrofR3e und Art zulsst.

Nach der Einfuhrung eines neuen Reinigungsmediums konnte im Jahr 2013 der
Reinigungsprozess dahingehend qualifiziert werden, dass eine Reinigung von
Fotomasken flr die optische Lithografie (193i) fur einen Technologieknoten < 16nm
maoglich ist. Hierdurch wird eine weitere Reduzierung der Beeintrachtigung der
optischen Eigenschaften und der Beschadigung der Strukturen auf den Masken
erzielt. Mit diesen Entwicklungen stellt SUSS MicroTec die entsprechenden Weichen,
um auch weiterhin seine Marktvorherrschaft zu behaupten und auszubauen sowie
Komplettldsungen fir die EUV Lithografie und 193i Technologie anzubieten.



F&E Ausgaben im Jahresvergleich in Mio. €

2013 2012
F&E Aufwand 10,2 9,7
F&E Abschreibung 2,3 2,5
F&E Aktivierung 0,1 0,1
F&E Netto-Aktivierung -2,2 -2,4
F&E Nettoinvestitionen + 8,0 7,3
Aufwand

Chart F&E Mitarbeiter 2012: 134 2013: 127

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Den Aussagen des ifo Instituts zufolge ist die deutsche Wirtschaft hoffnungsfroh ins
neue Jahr gestartet. Das ifo Geschaftsklima fur die gewerbliche Wirtschaft
Deutschlands hatte sich im Januar 2014 zum dritten Mal in Folge verbessert. Die
wirtschaftliche Situation in den Industrielandern wird zwar weiterhin durch die Folgen
der Finanzkrise belastet, aber auch hier stehen die Zeichen auf Erholung. Insgesamt
hat sich die seit Mitte 2013 anziehende Konjunktur in den fortgeschrittenen
Volkswirtschaften positiv auf das Weltwirtschaftsklima ausgewirkt. Fur das
Gesamtjahr 2013 prognostiziert der International Monetary Fund in seinem World
Economic Outlook ein Weltwirtschaftswachstum um 3,0 %, fur 2014 geht man von
einem beschleunigten Wachstum um 3,7 % aus.

BRANCHENSPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

Der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschaftsjahr um 4,8 % gewachsen. Das
Gesamtvolumen wuchs von 291,6 Mrd. USD im Jahr 2012 auf rund 305,6 Mrd. USD
im letzten Jahr (Quelle: Semiconductor Industry Association). Getragen wurde das
Wachstum durch eine starke Nachfrage nach DRAM und NAND Speicherbausteinen
fur die Segmente Smartphones und Tablet Computer.

Der Markt fur Halbleiter Equipment wies dagegen erneut einen Rickgang aus. Im
Jahr 2013 ist laut Gartner die Nachfrage nach Halbleiter Equipment insgesamt um
rund 8,5% gegenuber Vorjahr gesunken (2012: minus 16,1%). Die Equipment
Branche verzeichnet seit fast drei Jahren ein z6gerliches Investitionsverhalten der
Kunden, die Fertigungskapazitaten werden zum letztmdglichen Zeitpunkt erweitert
und grof3e Neuinvestitionen finden nur vereinzelt statt.




UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Im Prognosebericht des Geschaftsberichts 2012 hat das Unternehmen fur das
Geschaftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 150 Mio. € sowie ein Ergebnis (EBIT) im
niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich in Aussicht gestellt. SUSS MicroTec hat
das Geschaftsjahr 2013 mit einem Umsatz in Hohe von 134,5 Mio. € abgeschlossen.
Der Grund fur die Abweichung im Umsatz sind Verschiebungen der Endabnahme
von einzelnen gréfReren Auftrédgen, bei denen die Maschinen bereits zum Kunden
ausgeliefert wurden, die finale Abnahme und somit Umsatzlegung jedoch erst im
Geschaftsjahr 2014 stattgefunden hat bzw. stattfinden wird. Aufgrund des geringeren
Umsatzvolumens, eines ungunstigen Produktmix im Hinblick auf 200 mm und 300
mm Systeme und unter Beriicksichtigung der Sonderaufwendungen fir den Bereich
Permanentes Bonding in H6he von 13,2 Mio. € hat das Unternehmen ein EBIT von
minus 19,4 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr 11,7 Mio. €).

Der Auftragseingang ist im Jahresvergleich um 14,1 % auf 135,0 Mio. € gesunken
(Vorjahr: 157,2 Mio. €).

Die liquiden Mittel und verzinslichen Wertpapiere beliefen sich zum Ende des
Geschéftsjahres 2013 auf 47,1 Mio. €. Die Nettoliquiditat hat sich zum Jahresende
2013 auf 35,7 Mio. € (Vorjahr: 32,3 Mio. €) erh6ht, obwohl im letzten Jahr 8,9 Mio. €
in den Erwerb der Immobilie am Standort Garching investiert wurden. Der freie
Cashflow fur das Gesamtjahr Dbelief sich vor Bertcksichtigung von
Wertpapiererwerben und -verkaufen sowie Sondereffekten aus den getatigten M&A-
Aktivitdten auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: minus 4,5 Mio. €).

Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 85,7 Mio. € und lag nur leicht unter dem
Vorjahresniveau von 86,5 Mio. €.

Das Verhéltnis von neu eingegangen Auftragen zu realisierten Umsétzen (Book-to-
Bill-Ratio) belief sich 2013 auf 1,0 nach 0,96 im Vorjahr.

UMSATZE UND AUFTRAGSLAGE IN DEN REGIONEN

Europa, Nordamerika und Asien sind die fiir das Geschéft von SUSS MicroTec
wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und ,Sonstiges
Asien”, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt
Advanced Packaging vornehmlich aul3erhalb Japans — insbesondere in Taiwan —
ansassig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwankungsanfalliger als jener flr
Verbindungshalbleiter und MEMS.

Auftragseingdnge nach Regionen

Der Markt fiur Halbleiter-Equipment ist im Jahr 2013 um rund 8,5 % geschrumpft, dies
spiegelt sich auch bei SUSS MicroTec in riucklaufigen Umsatz- und
Auftragseingangszahlen wieder. Die Auftragseingange haben sich im Vergleich zum
Vorjahr um 14,1 % verringert.

Europa ist die einzige Region, die steigende Auftragseingdnge verbuchen konnte.
Die Region erreichte mit einem Auftragseingang von 41,9 Mio. € (Vorjahr:
36,0 Mio. €) ein Plus gegeniuber Vorjahr von rund 16%. Aufgrund von weniger
Auftrdgen aus den Produktlinien Fotomasken Equipment und Mask Aligner
verzeichnete die Region Nordamerika einen Rickgang um 36,4% im
Auftragseingang und erreichte im Gesamtjahr 2013 Auftrdge in Hohe 18,9 Mio. €
(Vorjahr: 29,7 Mio. €). Die Region Japan verzeichnete im Jahr 2013 einen



Auftragseingang von 6,6 Mio. €, was ein Minus von 47,2 % gegenuber dem Vorjahr
bedeutet. In dieser Region wurden im Vergleich zum Vorjahr vor allem weniger
Auftrdge aus dem Segment Substrat Bonder verbucht.

In der wichtigsten Region Sonstiges Asien (ohne Japan) verzeichnete die
SUSS MicroTec-Gruppe ein Auftragsminus in Hohe von 13,9 % auf 67,6 Mio. €
(Vorjahr: 78,5 Mio. €).

Auftragseingange nach Regionen in Mio. €

2013 2012
Europa 41,9 36,0
Nordamerika 18,9 29,7
Japan 6,6 12,5
Sonstiges Asien 67,6 78,5
Rest der Welt 0,0 0,5

Umséatze nach Regionen

Alle Regionen, mit Ausnahme der Region Europa, mussten im Vergleich zum Vorjahr
einen Ruckgang im Umsatz hinnehmen. In Europa erhdhte sich der Umsatz um rund
2 % auf 41,2 Mio.€ nach 40,5Mio.€ im Vorjahr. Die Region Nordamerika
verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Rickgang um 25,4 % auf 22,6 Mio. €
(Vorjahr: 30,3 Mio.€). Auch Japan erwirtschaftete mit 5,2 Mio. € einen deutlich
niedrigeren Wert als im Vorjahr (16,5 Mio.€). Die Region Sonstiges Asien
verzeichnete einen Umsatzriickgang um 14,4 % auf 65,5 Mio. € (Vorjahr: 76,5 Mio. €).

Umsatze nach Regionen in Mio. €

2013 2012
Europa 41,2 40,5
Nordamerika 22,6 30,3
Japan 52 16,5
Sonstiges Asien 65,5 76,5




GESCHAFTSENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN

Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb
der Produktlinien Mask Aligner, Projektionsscanner, Laser Processing Tools sowie
Developer und Coater. Die Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den
Standorten Garching bei Minchen und seit Anfang 2010 in Sternenfels angesiedelt.
Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisition der Tamarack
Scientific Co., Inc. (firmiert heute unter SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.)
verstarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Corona, Sudkalifornien, USA.
Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von 66 % der grof3te Bereich der
SUSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt
werden, gehen im Wesentlichen in die Endmarkte Advanced Packaging,
Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D-Integration.

Im Geschaftsjahr 2013 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von
87,9 Mio. € sowie einen Umsatz von 88,3 Mio. €. Dies entspricht einem Rickgang im
Auftragseingang um rund 8% bzw. einem Minus im Umsatz um 22 % gegenuber
Vorjahr. Obwohl viele unserer asiatischen Kunden mit hohen Auslastungsgraden im
Bereich um 90 % arbeiten, werden Investitionen zur Kapazitdtsausweitung weiterhin
nur sehr zodgerlich ausgefuhrt. Im abgelaufenen Geschaftsjahr gab es nur wenige
nennenswerte Investitionen in 300mm Geréate, welche fiir SUSS MicroTec typischer
Weise eine sehr gute Bruttomarge ausweisen. Das verringerte Segmentergebnis
(EBIT) ist dem ungunstigen Produktmix im Hinblick auf 200mm und 300mm Gerate,
der Belastung durch den negativen Ergebnisbeitrag von SUSS MicroTec Photonic
Systems sowie dem insgesamt gesunkenen Umsatz geschuldet. Das EBIT fiel von
23,7 Mio. € im Vorjahr auf 3,2 Mio. € im abgelaufenen Geschaftsjahr, dies ist ein
Rickgang um 87 %. Die Bruttomarge hat sich gegentuber Vorjahr deutlich verringert
und lag 2013 bei 27,2 % (Vorjahr: 40,7 %).

Segmentibersicht Lithografie (in Mio. €)

2013 2012
Auftragseingang 87,9 95,6
Segmentumsatz 88,3 113,2
Segmentergebnis 3,2 23,7
Nettovermobgen 443 49,9

Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den
Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Die Fertigung ist an unserem grof3ten Standort
in Sternenfels angesiedelt. Zu den adressierten Markten der Substrat Bonder zéhlen
die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.




Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit
24,3 Mio. € (Vorjahr: 27,4 Mio.€) als auch im Umsatz mit 22,9 Mio.€ (Vorjahr:
23,1 Mio.€) verhalten. Das Segmentergebnis (EBIT) fiel aufgrund der
Sonderbelastungen der Restrukturierung im Bereich permanentes Bonden in Hohe
von 13,2 Mio. € von minus 12,0 Mio. € im Jahr 2012 auf minus 21,7 Mio. €. Die
Bruttomarge verschlechterte sich von minus 10,1 % auf minus 53,5 %.

Aufgrund der Neubewertung der Geschaftssituation im Bereich Permanentes
Bonding und der weiterhin unbefriedigenden Ertragslage in dieser Produktlinie,
wurden die im zweiten Quartal des Jahres 2013 eingeleiteten Restrukturierungs-
mafinahmen erweitert und die Produktion von Permanenten Bond Cluster Systemen
eingestellt. Die am Markt erfolgreichen manuellen Permanent Bonding Systeme sind
von dieser MalRnahme nicht betroffen. Die Restrukturierungsmafinahmen haben im
Gesamtjahr 2013 Sonderaufwendungen in H6he von insgesamt 13,2 Mio. € nach
sich gezogen. Die Sonderaufwendungen beinhalten 9,3 Mio. € aus der Abwertung
von Vorraten (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie
Demoequipment) sowie 2,7 Mio. EUR aus vorsorglich gebildeten Rickstellungen fir
einzelne Kundenprojekte und 1,2 Mio. € nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen,
die im Wesentlichen auf aktivierte Entwicklungsleistungen aus den Jahren bis 2008
entfallen. Mit Vollzug dieser MalBnahme erwartet das Management von
SUSS MicroTec in Zukunft eine deutliche Reduzierung der Verluste im Segment
Substrat Bonder.

Segmentibersicht Substrat Bonder (in Mio. €)

2013 2012
Auftragseingang 24,3 27,4
Segmentumsatz 22,9 23,1
Segmentergebnis -21,7 -12,0
Nettovermogen 8,7 34,9

Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und
den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von
Fotomasken fir die Halbleiterindustrie spezialisiert sind und ist am Standort
Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Markten des Segments
Fotomasken Equipment zahlt die Halbleiterindustrie, hier ist SUSS MicroTec im
Frontend tatig.

Auch das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abgelaufenen
Geschaftsjahr im Auftragseingang und Umsatz verhalten. Der Auftragseingang lag
Ende Dezember 2013 bei 17,5 Mio. € (Vorjahr: 30,2 Mio. €). Der Segmentumsatz
belief sich auf 18,4 Mio. € nach 22,9 Mio. € im Jahr 2012. Das Segmentergebnis
(EBIT) hat sich verbessert und weist im abgelaufenen Geschéftsjahr einen Wert von
1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) aus. Die Bruttomarge lag nach 27,6 % im Vorjahr bei
33,3 %.




Segmentiubersicht Fotomasken Equipment (in Mio. €)

2013 2012
Auftragseingang 17,5 30,2
Segmentumsatz 18,4 22,9
Segmentergebnis 1,6 11
Nettovermobgen 3,6 8,9

Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitdten am Standort Hauterive,
Schweiz, und das Geschaftsfeld CANP sowie die grof3tenteils auf Segmentebene
nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. Der Anteil an dem
Mikrooptik-Geschaft wurde im ersten Halbjahr 2012 von 85 % auf 100 % aufgestockt.
Damit soll das Unternehmen SUSS MicroOptics, welches wichtige Schlissel-
technologien beherrscht, noch enger an SUSS MicroTec gebunden werden.

Der Auftragseingang steigerte sich von 4,0 Mio.€ im Geschaftsjahr 2012 auf
5,3 Mio.€ im Jahr 2013. Der Segmentumsatz belief sich auf 4,9 Mio.€ nach
4,6 Mio.€ im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hierbei verzeichnete das
Geschaftsfeld Mikrooptik im Auftragseingang einen deutlichen Zuwachs von
3,9 Mio. € auf 5,2 Mio. € sowie einen stabilen Umsatz in Hohe von 4,6 Mio. €. Fur das
Geschaftsjahr 2013 belief sich das Segmentergebnis auf minus 2,4 Mio. € nach
minus 1,0 Mio. € im Vorjahr.

Segmentibersicht Sonstige (in Mio. €)

2013 2012
Auftragseingang 5,3 4.0
Segmentumsatz 4.9 4.6
Segmentergebnis -2,4 -1,0
Nettovermobgen 18,5 7,7




Mitarbeiter nach Segmenten

2013 2012
Lithografie 404 419
Substrat Bonder 99 134
Fotomasken Equipment 100 106
Sonstige 52 45

NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

SUSS MicroTec verfligt tiber mehr als sechzig Jahre Erfahrung in der Fertigung von
Anlagen und Entwicklung von Prozesslésungen fur Mikrostrukturanwendungen. Das
Unternehmen hat fur die Halbleiterindustrie Standards in Prézision und Qualitat
gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fahigkeit, stets neue
Losungen in einem sich schnell andernden Umfeld bereit zu stellen, haben
SUSS MicroTec zum Technologiefiihrer gemacht.

Qualitatsmanagement

Die technologisch fiilhrende Position von SUSS MicroTec in den Bereichen
Lithografie, Fotomasken Equipment, Substrat Bonder und Mikrooptik fuld3t auf der
starken Verpflichtung zur Einhaltung hochster Qualitatsstandards. Unsere
Qualitatsziele basieren auf nachhaltigem Kundenvertrauen, Wertschatzung
gegenuber unseren Kunden, Partnerschaften und motivierten Mitarbeitern.
SUSS MicroTec liefert qualitativ hochwertige Produkte und Services sowie innovative
LOosungen.

Alle Bereiche von SUSS MicroTec teilen unsere Verpflichtung zu hochster Qualitét.
Unsere Prozesse basieren auf einem effektiven Qualitatsmanagement-System, das
fur die Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz unter ISO 9001
zertifiziert ist und standig verbessert wird.

Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit geniefl3t bei uns eine sehr hohe Prioritat. Als
Technologiefihrer und Innovationstreiber fihlt sich das Unternehmen nicht nur der
Erstklassigkeit der Produkte, sondern auch dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet.
Es geht bei den Managemententscheidungen immer auch darum, die sozialen,
Okologischen und 6konomischen Komponenten in Einklang zu bringen. Ob mit
Kunden, Mitarbeitern oder Wettbewerbern, wir streben allzeit nach einem fairen und
sozial vertraglichen Umgang miteinander. Dariiber hinaus legt SUSS MicroTec die
gleichen hohen Mal3stabe an die Zulieferer und Geschéftspartner.

In den vergangenen Jahren hat SUSS MicroTec am Produktionsstandort Garching
verschiedene energieeffiziente MaRnahmen, wie beispielsweise die Optimierung der
Pumpensysteme in der Heizungs- u. Klimatechnik, den Einsatz von Druck-
luftkompressoren mit Warmertickgewinnung, neue Beleuchtungskonzepte sowie
generell einen energiebewussteren Umgang mit Energie eingefiuhrt. Mit diesen
Mal3nahmen konnte der Stromverbrauch seit 2008 um mehr als 15% gesenkt werden.




Aufgrund altersbedingter Funktionsdefizite wurden im Geschaftsjahr 2013 die
Kalteaggregate am Standort Garching in mehreren Bauabschnitten in den
Reinraumen erneuert. Die zwei neuen Kalteaggregate, die mit einer ,Freien
Kidhlung® ausgestattet sind, kdnnen Energieeinsparungen bei Aul3entemperaturen
unter 11°C bewirken. Erfahrungsgemald geht man davon aus, dass sich bei diesen
Temperaturen (an ca. 90 Tagen/ Jahr) der Kuhlbedarf um ca. 30% reduziert, d. h. die
Kompressoren der Kaltemaschinen werden dadurch entlastet und die Energiekosten
gesenkt. Die neuen Kaltemaschinen wurden in einem Kalteverbund so installiert,
dass jetzt eine redundante Kalteherstellung gegeben ist, d. h. im Stérungsfall (z. B.
Ausfall einer Kaltemaschine, Wartungsarbeiten) wird die Produktion deshalb nicht
beeintrachtigt. Mit diesen Umbauarbeiten hat das Unternehmen die
Produktionssicherheit am Standort Garching erhdoht und gleichzeitig eine weitere
energieeffiziente Malinahme durchgefthrt

SUSS MicroTec ist weiterhin Partner der Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence
des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) und bekennt sich
zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Handeln. Zudem fihlt sich das
Unternehmen dem Verhaltenskodex der Electronic Industry Citizenship Coalition®
(EICC®) verpflichtet und hat die fur die 1ISO 14001-Zertifizierung notwendigen Teile
umgesetzt. Der EICC® setzt Normen fest, die sichere Arbeitsbedingungen in der
Beschaffungskette der Elektronikindustrie, eine respekt- und wirdevolle Behandlung
der Arbeitskrafte sowie umweltgerechte und ethisch vertretbare Geschéftsprozesse
gewabhrleisten sollen.

Mitarbeiter

Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen uns ganz besonders am
Herzen. Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld fordert sowohl die Produktivitat als
auch das Arbeitsklima im Unternehmen. Wie in unserer Erklarung zu Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit dargelegt, ( > Unternehmen >
Qualitditsmanagement) gibt es spezielle Programme, um die hdochsten Standards im
Hinblick auf Sicherheit zu erfullen. Wir fihren an unseren Produktionsstandorten
detaillierte Statistiken Uber Arbeitsunfalle und werten diese regelmalRlig aus. In
regelmafldigen Abstdnden bieten wir dartiber hinaus betriebsérztliche Termine z. B.
zu kostenlosen Sehtests oder Schutzimpfungen an.

Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter weltweit sowie unser Umgang mit Kunden
und Geschéftspartnern ist gepragt von gegenseitigem Respekt, integrem Handeln
und der Einhaltung ethischer Richtlinien und Gesetze. Um die zahlreichen
rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der taglichen Arbeit zu bewaltigen,
Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integritdt der
SUSS MicroTec-Gruppe zu starken, haben wir einen Verhaltenskodex (,Code of
Conduct”) verabschiedet, dessen Einhaltung fir alle Mitarbeiter weltweit verbindlich
ist.

Kundenbeziehungen

Im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Geschaftspartnern legen wir grof3en Wert
auf die Einhaltung hoher ethischer Standards. Wir sind der Meinung, dass dies
entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Dazu geho6rt der korrekte
Umgang mit insiderrelevanten Informationen, mit dem geistigen Eigentum der
Mitarbeiter und vertraulichen Informationen von Kunden und Lieferanten.



Zu unseren Kunden zahlen unter anderem namhafte Integrated Device
Manufacturers (IDM) in aller Welt und zahlreiche Kunden im Bereich Outsourced
Assembly and Test Houses (OSAT). DarUber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren
mit fuhrenden Universitdten und Forschungsinstituten im In- und Ausland sehr
erfolgreich zusammen. Im Rahmen der Entwicklung von neuen und innovativen
Technologien, Maschinen und L6sungen, gehen wir zudem Partnerschaften und
Kooperationen mit anderen Industrieunternehmen ein.

Ertrags-, Finanz- und Vermdgenslage

Die Ertragslage des SUSS MicroTec Konzerns zeigt im Geschaftsjahr 2013 einen
deutlichen Umsatzrickgang und ein negatives Jahresergebnis. Die Umsatze sanken
im Vergleich zum Vorjahr um rund 18 % und beliefen sich auf 134,5 Mio. €, wahrend
im Vorjahr noch Umsatze von 163,8 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor
Zinsen und Steuern) aus fortgefuhrten Aktivitdten belief sich im abgelaufenen
Geschéftsjahr auf minus 19,4 Mio. €. In 2012 wurde ein positives EBIT von
11,7 Mio. € erreicht.

Im EBIT des Geschaftsjahres 2013 sind Sonderaufwendungen in Ho6he von
13,2 Mio. € enthalten, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von
Permanent Bond Cluster Systemen angefallen sindl. Dabei handelt es sich um
Wertminderungen auf Lagerbestande (9,3 Mio. €), aullerplanmafdige Abschrei-
bungen auf aktivierte Entwicklungskosten (1,2 Mio. €), Wertberichtigungen auf
Kundenforderungen (0,5 Mio. €) und Bildung von Ruckstellungen fir sonstige
Verpflichtungen (2,2 Mio. €). Ohne diese Sonderaufwendungen wirde das EBIT
2013 rund minus 6,2 Mio. € betragen.

Der Rulckgang der Umsatzerlése resultiert im Wesentlichen aus geringeren
Umsétzen im Segment Lithografie. Wahrend im Vorjahr noch Lithografie-Umséatze
von 113,2 Mio. € erzielt werden konnten, beliefen sich die Umsétze im abgelaufenen
Geschaéftsjahr nur auf 88,3 Mio. €. Der Rickgang betraf sowohl die Produktlinie Mask
Aligner als auch die Produktlinie Coater. Das in 2012 neu hinzugekommene
Geschéaft von SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) mit
den Produktlinien UV-Projektionsbelichtung und Laser-Prozessierung trug mit
Umséatzen von 11,6 Mio. € zum Konzernumsatz bei. In 2012 (seit dem
Akquisitionszeitpunkt 29. Marz 2012) wurden mit den Photonic-Systems-
Produktlinien lediglich Umsatze von 1,9 Mio. € erzielt. Die Umsatze im Segment
Substrat Bonder bewegten sich mit 22,9 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau (Umsatz
2012: 23,1 Mio. €). Im Segment Fotomasken Equipment wurden mit 18,4 Mio. € rund
20 % geringere Umsatze erzielt als im Vorjahr. Die Umsatze im Bereich Mikrooptik
erhohten sich leicht von 4,3 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,6 Mio. €.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Hohe
von 2,3 Mio. € enthalten. Davon betreffen 1,2 Mio. € aullerplanméaliige
Abschreibungen auf Entwicklungsleistungen, die in der Vergangenheit im

1 siehe Ad-Hoc-Mitteilung der SUSS MicroTec AG vom 6. November 2013



Zusammenhang mit dem Bereich Permanent Bond Cluster aktiviert wurden. Die Neu-
Aktivierungen beliefen sich auf knapp 0,1 Mio. €. Im Vorjahr wurden Abschreibungen
auf aktivierte Entwicklungskosten von 2,5 Mio. € erfasst, wahrend sich die Neu-
Aktivierungen ebenfalls auf 0,1 Mio. € summierten.

Im Geschéftsjahr 2013 wurde ein Rohertrag von 21,8 Mio. € erzielt, was einer
Rohertragsmarge von 16,2 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag
57,4 Mio. €; die Rohertragsmarge 2012 belief sich auf 35,0 %. Der Rohertrag des
Geschaftsjahres 2013 ist belastet mit Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit
der Restrukturierung des Permanent Bond Cluster Bereichs. Von den gesamten
Sonderaufwendungen in Hohe von 13,2 Mio. € sind 10,5 Mio. € in den Umsatzkosten
erfasst. Daruber hinaus enthalten die Umsatzkosten aulR3erplanmalige
Abschreibungen in Hohe von 1,9 Mio. € auf Maschinen im Vorratsbestand der SUSS
MicroTec Photonic Systems, die im Rahmen der Purchase Price Allocation im
Vorjahr neu bewertet wurden.

Der Rohertrag im Segment Lithografie war im abgelaufenen Geschéaftsjahr deutlich
geringer als noch im Vorjahr. Die Rohertragsmarge war belastet durch das negative
Rohergebnis der Photonic-Systems-Produktlinien, die mit Umséatzen von 11,6 Mio. €
einen substantiellen Umsatzbeitrag geleistet haben. Dartber hinaus hat das geringe
Umsatzvolumen der Produktlinien Mask Aligner und Coater sowie der unginstige
Produktmix die Rohertragsmarge negativ beeinflusst.

Das Rohergebnis des Segments Substrat Bonder war erneut negativ. Neben den
erfassten Sonderaufwendungen von 13,2 Mio. € ist das Rohergebnis auch belastet
durch die unterjdhrig angefallenen negativen Margen der Permanent Bond Cluster
Systeme. Die Umséatze im Bereich Temporary Bonding und De-Bonding erzielten —
aufgrund der noch geringen Sttickzahlen — nur niedrige Margen.

Erfreulich hat sich die Rohertragsmarge des Segments Fotomasken Equipment
entwickelt. Aufgrund einiger margenstarker Auftrage lag die Rohertragsmarge
deutlich Uber der im Vorjahr erzielten Marge.

Die Vertriebskosten des Geschéftsjahres verringerten sich von 20,7 Mio. € im Vorjahr
auf 17,5 Mio. €, was — in Relation zum erzielten Umsatz — einer Aufwandsquote von
13,0 % (Vorjahr: 12,6 %) entspricht.

Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 17,0 Mio. € im Vorjahr auf nun
15,0 Mio. € und entsprechen damit einer Aufwandsquote von 11,1 % (Vorjahr:
10,4 %).

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhohten sich von 9,7 Mio. € im Vorjahr auf
10,2 Mio. €. Sie betrafen mit 5,4 Mio. € das Segment Lithografie und mit 3,0 Mio. €
das Segment Substrat Bonder. 1,4 Mio. € waren dem Segment Fotomasken
Equipment zuzuordnen. In den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen des
Segments Substrat Bonder sind im abgelaufenen Geschaftsjahr 1,2 Mio. €
Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent
Bond Cluster Bereichs erfasst.



Die sonstigen betrieblichen Ertrage betrugen im Geschaftsjahr 5,5 Mio. € (Vorjahr:
6,1 Mio. €) und beinhalten vor allem Ertrage aus Fremdwahrungsumrechnungen.
Daruber hinaus sind hier Ertrage aus der Reduzierung der Earn-Out-Verpflichtung
Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) in Hohe von 2,1 Mio. € enthalten.
Die Auflosung der entsprechenden Verbindlichkeit resultiert aus einer Neubeurteilung
der voraussichtlichen Ertragslage von SUSS MicroTec Photonic Systems, auf deren
Basis der Earn-Out fur die Verkaufer und die Mitarbeiter von Photonic Systems
ermittelt wird. Auch im Vorjahr wurden hier Ertrage aus einer Anpassung der Earn-
Out-Verpflichtung in H6he von 2,1 Mio. € erfasst.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich in 2013 auf 4,1 Mio. €
(Vorjahr: 4,4 Mio. €) und beinhalten vor allem Aufwendungen aus Fremdwahrungs-
umrechnungen sowie Aufwendungen fir die Bildung von Wertberichtigungen auf
Kundenforderungen. In den Wertberichtigungen auf Kundenforderungen sind
0,5 Mio. € enthalten, die ein Kundenprojekt des Bereichs Permanent Bond Cluster
betreffen und daher im Rahmen der Restrukturierung dieses Bereichs wertberichtigt
wurden.

Das Segment Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Hohe von 3,2 Mio. €
(Vorjahr: 23,7 Mio. €) zum Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei.
Damit ergibt sich fur das Segment Lithografie eine Umsatzrendite von 3,6 %, die sich
im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert hat (Umsatzrendite des Vorjahres:
20,9 %). Der Rickgang des Ergebnisses und der Umsatzrendite des Segments
Lithografie ist zum einen auf die nun enthaltenen Produktlinien von Photonic
Systems (vormals: Tamarack Scientific) zurlckzufuhren, die einen Umsatzbeitrag
von 11,6 Mio. € und ein negatives EBIT von minus 5,1 Mio. € beisteuerten. In diesem
EBIT-Betrag sind auch Ertrage aus der Auflésung einer Earn-Out-Verbindlichkeit in
Hb6he von 2,1 Mio. € enthalten. Zum anderen war das EBIT des Segments Lithografie
negativ beeinflusst durch ein geringes Umsatzvolumen der Produktlinien Mask
Aligner und Coater sowie durch einen unginstigen, margenschwachen Produktmix.

Im Segment Substrat Bonder ergibt sich ein EBIT von minus 21,7 Mio. € nach
minus 12,0 Mio. € im Vorjahr. Das Ergebnis ist belastet mit Sonderaufwendungen in
Hb6he von 13,2 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von
Permanent Bond Cluster Systemen angefallen sind. Zudem liegt die Bruttomarge von
Substrat Bondern fir temporares Bonden und De-Bonden nach wie vor im niedrigen
einstelligen Prozentbereich.

Das Segment Fotomasken Equipment trug mit einem Ergebnis von 1,6 Mio. €
(Vorjahr: 1,1 Mio. €) zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 8,4 % und hat
sich damit im Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2012: 4,8 %) erh6ht. Grund flr
die — trotz eines geringeren Umsatzes — erhdhte Umsatzrendite sind im Wesent-
lichen einige margenstarke Auftrage, die in 2013 realisiert werden konnten.

Das Finanzergebnis belief sich 2013 auf minus 0,1 Mio. € (nach 11 Tsd. € im Vorjahr).

Das Konzernergebnis ist mit einem Steuerertrag in Hohe von 3,6 Mio. € belegt, was
einer durchschnittlichen Steuerquote von rund 18 % entspricht. Grund ftir die geringe
Steuerquote sind im Geschaftsjahr 2013 aufgelaufene Verluste auslandischer
Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), fur die unter Berticksichtigung
der aktuellen Konzernplanung keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden. Im



Vorjahr war das Konzernergebnis mit einem Steueraufwand von 4,1 Mio. € belastet;
die durchschnittliche Steuerquote betrug im Vorjahr rund 35 %.

Im Konzern ergab sich ein Verlust nach Steuern aus fortgeflhrten Aktivitaten von
minus 16,0 Mio. €. Dem steht im Vorjahr ein Gewinn von 7,6 Mio. € gegenuber.

Aus nicht fortgefiihrten Aktivitaten erzielte der Konzern im Vorjahr ein Ergebnis nach
Steuern von 1,5 Mio. €, das ausschlief3lich dem nicht fortgefiihrten Bereich Test
Systeme zuzuschreiben ist. Der erzielte Ertrag resultierte aus einer nachtraglichen
Kaufpreiszahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Test-Business, die der
SUSS MicroTec AG im Februar 2012 ausbezahlt wurde.

Insgesamt erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von minus
16,0 Mio. € (Vorjahr: 9,1 Mio.€). Das unverwasserte Ergebnis je Aktie aus
fortgeflihrten und nicht fortgefihrten Aktivitdten betrug minus 0,84 € nach 0,48 € im
Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,0 % von
233 Tsd. € auf 205 Tsd. € (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum
Bilanzstichtag).

Die Net Cash Position des Konzerns — der Saldo aus flissigen Mitteln sowie
verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten — erhdhte sich von
32,3 Mio. € im Vorjahr auf 35,7 Mio. € zum 31. Dezember 2013. Der Bestand an
liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhdhte sich von 36,6 Mio. € im
Vorjahr auf 47,1 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschaft belief sich auf 16,3 Mio. € (Vorjahr:
minus 0,6 Mio. €). Hier machte sich vor allem der deutliche Anstieg des Bestands an
erhaltenen Anzahlungen bemerkbar, aus dem ein Mittelzufluss in HBhe von
13,6 Mio. € resultierte. Daneben waren Mittelzuflisse von 8,2 Mio. € aus dem
Rickgang der Kundenforderungen zu verzeichnen. Die Verdnderung der
Lieferantenverbindlichkeiten sowie der Ubrigen Verbindlichkeiten und Rickstellungen
haben Mittelabfliisse von 0,9 Mio. € und 2,3 Mio. € nach sich gezogen.

Der Cashflow aus der Investitionstatigkeit betrug ohne Berlcksichtigung der
Investitionen in Wertpapiere minus 12,2 Mio. €. Fir den Erwerb der Immobilie am
Firmenhauptsitz in Garching flossen liquide Mittel in Hohe von 8,9 Mio. € ab. Neben
dem Kaufpreis von 8,6 Mio. € sind hier Erwerbsnebenkosten von 0,3 Mio. € enthalten.
Die ubrigen Investitionen in Sachanlagen betrafen teilweise die Fertigstellung von
Einbauten (insbesondere ein neuer Reinraum) in den neu gemieteten Raumen der
SUSS MicroOptics (Hauterive / Schweiz), fur die Mittelabflisse von rund 1,3 Mio. €
zu verzeichnen waren. Daruber hinaus wurden vor allem Neuanschaffungen in
technische Anlagen und Maschinen sowie in Betriebs- und Geschaftsausstattung der
deutschen Gesellschaften getétigt. Die Investitionen in immaterielle Vermoégenswerte
betrafen Uberwiegend Software. Im Vorjahr betrug der Cashflow aus
Investitionstéatigkeit ohne Beriicksichtigung der Investitionen in Wertpapiere und
bereinigt um den Erwerb der Tamarack Scientific Co., Inc. (hun: SUSS MicroTec



Photonic Systems Inc.) sowie ohne Berilcksichtigung der nachtraglichen
Kaufpreiszahlung fir das Test Business minus 4,2 Mio. €.

Der freie Cashflow belief sich damit — vor Berucksichtigung von Wertpapiererwerben
und —verkaufen — auf 4,1 Mio. €, Im Vorjahr wurde ein freier Cashflow (bereinigt um
die Effekte aus Wertpapiererwerben und -verk&ufen und bereinigt um die
Zahlungsstrome aus dem Kauf Tamarack Scientific und dem Verkauf Test) von
minus 4,5 Mio. € erzielt.

Der Cashflow aus Finanzierungstatigkeit beinhaltet einen Zufluss von 7,5 Mio. € aus
der Aufnahme eines Bankdarlehens, mit dem der Erwerb der Immobilie Garching
gegenfinanziert wurde. Das Darlehen weist einen fixen Zinssatz und eine Laufzeit bis
zum 30. Juni 2021 auf. Es wurde im Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung
gebracht. Dariiber hinaus zeigt sich im Cashflow aus Finanzierungstatigkeit — wie im
Vorjahr — die planmafige Tilgung des Immobiliendarlehens Sternenfels. Im Vorjahr
waren im Cashflow aus Finanzierungstatigkeit auch Mittelabflisse von 0,8 Mio. €
enthalten, die die planmaiige Tilgung des Finanzierungsleasings fir das
konzernweite SAP-System betrafen. Im Dezember des Vorjahres wurde auf3erdem
das Schuldscheindarlehen mit 9 Mio. € zur Riuckzahlung féallig und komplett aus den
vorhandenen liquiden Mitteln getilgt. Dariber hinaus war im Cashflow aus
Finanzierungstatigkeit des Vorjahres der Abfluss von 1,2 Mio. € flir den Erwerb von
15 % der Anteile an der SUSS MicroOptics S.A. (Hauterive / Schweiz) erfasst, die bis
zum Erwerbszeitpunkt von Minderheitsaktionaren gehalten wurden.

Neben liqguiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Hohe von 47,1 Mio. €
(Vorjahr: 36,6 Mio. €) verfugt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres Uber
inlAndische Aval- und Kreditlinien von 8,0 Mio. € (Vorjahr: 11,2 Mio. €). Die Linie
wurde im Berichtsjahr ausschliel3lich in Form von Avalen in Anspruch genommen.
Der wesentliche Teil davon entféllt auf Anzahlungsbirgschaften. Zum Bilanzstichtag
betrug die Inanspruchnahme 3,3 Mio. €.

Zum 1. April 2013 haben die SUSS MicroTec AG und die SUSS MicroTec Litho-
graphy GmbH mit dem Bankenkonsortium unter FUhrung der BayernLB neue
Kreditvertrdge unterzeichnet, mit denen eine Kreditlinie von insgesamt 4,5 Mio. €
gestellt wird. Dem Bankenkonsortium gehoren aul3erdem die Deutsche Bank sowie
die DZ Bank AG an. Die Kreditlinien werden bis auf weiteres gewahrt und wurden
ohne Covenants gestellt. Sie dienen in erster Linie der Unterlegung von
Anzahlungsburgschaften.

Zwischen der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG und der BW
Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Kreditlinie in Hohe
von 1,0 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie lauft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne
Covenants gestellt. Die SUSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine
harte Patronatserklarung fur die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co.
KG abgegeben.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem
Kautionsversicherungsvertrag ein Blrgschaftsrahmen in Hohe von 2,5 Mio. €. Der
Kautionsversicherungsvertrag lauft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie
wurde ein Festgeldkonto in Hohe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft
abgetreten.



Der Konzern verfiigt insgesamt tber geniigend finanziellen Spielraum, notwendige
Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitaten zu finanzieren.

Neben dem Geschéafts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die durch
Unternehmensakquisition erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic
Systems sowie die Betriebsgrundstiicke in Garching und in Sternenfels die
langfristigen Vermogenswerte.

Der Geschafts- oder Firmenwert betragt 15,3 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €). Ein Teill
des Goodwills (2,4 Mio. USD) wird in USD gefuhrt und unterliegt daher
Wahrungsschwankungen. Der gesamte Geschafts- oder Firmenwert ist
ausschlief3lich dem Segment Lithografie zuzuordnen.

Die aktivierten Entwicklungskosten entwickelten sich im Berichtsjahr riicklaufig: Nach
3,0 Mio. € im Vorjahr betrugen sie zum Bilanzstichtag noch 0,8 Mio. €. Neben
planmanigen Abschreibungen in Hohe von 1,1 Mio. € wurden auf3erplanmaliige
Abschreibungen von 1,2 Mio. € im Zusammenhang mit der Restrukturierung des
Permanent Bond Cluster Bereichs vorgenommen. Neuaktivierungen wurden nur
noch in H6he von knapp 0,1 Mio. € vorgenommen. Die zum Bilanzstichtag aktivierten
Entwicklungsleistungen entfielen vollstandig auf das Segment Lithografie. Im Vorjahr
waren neben Entwicklungskosten des Segments Lithografie in H6he von 1,3 Mio. €
weitere Entwicklungskosten in Hohe von 1,7 Mio. € aktiviert, die dem Segment
Substrat Bonder zuzuordnen waren.

Daruber hinaus enthalten die langfristigen Vermdgenswerte Lizenzen und Patente
sowie aktivierte Leasing-Gegenstande (SAP-Lizenzen) in Hohe von 2,3 Mio. €
(Vorjahr: 2,7 Mio. €). Der Restbuchwert von 2,3 Mio. € entfallt in Ho6he von 1,5 Mio. €
(Vorjahr: 1,9 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken
Equipment sowie in Hohe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) auf das Segment
Sonstige. Unter den immateriellen Vermdgenswerten ist au3erdem die im Rahmen
der Photonic-Systems-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum
Stichtag einen Restbuchwert von 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €) aufweist.

Grollten Anteil am konzernweiten Sachanlagevermdégen haben die beiden
Betriebsgrundstiicke in Garching und Sternenfels, die zum Jahresende einen
Restbuchwert von 13,8 Mio. € aufweisen. Dort sind die SUSS MicroTec Lithography
GmbH, die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG sowie die SUSS
MicroTec AG ansassig. Das Grundstlck in Sternenfels gehort bereits seit 2010 zum
Konzernvermégen, wahrend das Grundstick in Garching in 2013 fur insgesamt
8,9 Mio. € erworben wurde.

Das ubrige Sachanlagevermégen ist von geringerer Bedeutung fir die Vermégens-
lage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der
Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich (ohne Grund und Boden
bzw. Gebaude) im Berichtsjahr auf 2,4 Mio. € im Vergleich zu 4,8 Mio. € im Vorjahr.
Als grof3te Investition ist die Fertigstellung von Einbauten (insbesondere eines
Reinraums) und die Neuanschaffung von Betriebs- und Geschéaftsausstattung fur die
gemieteten Geschaftsraume der SUSS MicroOptics S.A. (Hauterive / Schweiz) zu
nennen, die im Geschéaftsjahr 2013 insgesamt Anschaffungskosten von rund
1,3 Mio. € verursachte.



Insgesamt ist das Sachanlagevermégen im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Mio. €
gestiegen.

Die latenten Steueranspriiche betragen zum Stichtag 5,7 Mio. € nach 1,5 Mio. € im
Vorjahr. Sie erhohten sich im Wesentlichen durch die Neubildung von aktiven
latenten Steuern auf Verlustvortrdge. Dabei wurde unterstellt, dass die
ertragsteuerliche Organschaft in Deutschland (mit der SUSS MicroTec AG als
Organtrager und den Organgesellschaften SUSS MicroTec Lithography GmbH und
SUSS MicroTec Reman GmbH) die in 2013 aufgelaufenen Verluste vollstandig
nutzen wird. Fir die Verlustvortrage der US-Gesellschaften wurden hingegen — unter
Bericksichtigung der aktuellen Konzernplanung — keine aktiven latenten Steuern auf
Verlustvortrage angesetzt.

Die kurzfristigen Vermdgenswerte sind im Berichtsjahr um 10,2 Mio.€ auf nun
132,9 Mio. € zurickgegangen. Dieser Rickgang resultierte im Wesentlichen aus
einem geringeren Bestand an Vorratsvermdgen und Kundenforderungen. Der
Bestand an Wertpapieren ist ebenfalls zuriickgegangen. Im Gegenzug sind jedoch
die flissigen Mittel zum Bilanzstichtag deutlich angestiegen.

Die Vorrate verringerten sich von 82,2 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 71,1 Mio. €
zum Jahresende. Der Rickgang ist im Wesentlichen auf die zusatzlich
vorgenommenen Wertberichtigungen zurtickzuftiihren, die im Geschaftsjahr rund
10,5 Mio. € betrugen. Davon entfielen 9,3 Mio. € auf Sonderabwertungen im
Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent Bond Cluster Bereichs. Der
Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat sich von 27,5 Mio. € im Vorjahr auf
nun 25,2 Mio. € reduziert. Auch der Bestand an unfertigen Erzeugnissen ist von
34,0 Mio. € im Vorjahr auf 23,3 Mio. € zurlickgegangen. Im Gegenzug erhéhte sich
der Bestand an Fertigerzeugnissen von 14,6 Mio. € im Vorjahr auf 24,2 Mio. €.
Davon entfallen 22,6 Mio. € (Vorjahr: 12,6 Mio. €) auf Maschinen, die bereits an
Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Abnahme jedoch noch aussteht. Auch
der Bestand an Demonstrationsgeraten stieg von 19,9 Mio. € im Vorjahr auf
21,5 Mio. € an

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich im Vergleich zum
Vorjahr deutlich von 21,8 Mio. € auf 11,1 Mio. €. Der Rickgang ist im Wesentlichen
stichtagsbedingt.

Der Bestand an Wertpapieren des SUSS MicroTec-Konzerns ging in 2013 von
11,4 Mio. € auf 2,1 Mio. € zurick. Bei den bilanzierten Wertpapieren handelt es sich
um Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Bestand an liquiden Mitteln erhéhte sich
im Gegenzug von 25,2 Mio. € auf 45,1 Mio. €.

Der Zuwachs der sonstigen Vermogenswerte von 1,7 Mio. € im Vorjahr auf 2,5 Mio. €
zum Jahresende ist im Wesentlichen auf einen hoéheren Stand an geleisteten
Anzahlungen zurlckzufuhren, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden erhéhten sich von 11,0 Mio. € auf 14,6 Mio. €. Grof3ten
Anteil an den langfristigen Schulden haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im
Geschéftsjahr auf 10,3 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €) beliefen. Neben dem langfristigen
Teil des Darlehens Sternenfels wird hier auch der langfristige Teil des neuen



Darlehens ausgewiesen, das fir die Grundsticksfinanzierung Garching
aufgenommen wurde. Unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind im
Geschaftsjahr aul3erdem der langfristige Teil der Earn-Out-Verpflichtung in Hohe von
0,2 Mio. € fur die Akquisition der SUSS MicroTec Photonic Systems sowie der
langfristige Teil der noch ausstehenden Kaufpreisverpflichtung fir den Erwerb der
Minderheitenanteile an der SUSS MicroOptics in H6he von 0,1 Mio. € ausgewiesen.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Anstieg von 42,2 Mio. € im Vorjahr
auf 55,8 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Grof3ten Anteil an diesem Anstieg
hatte der Stand der erhaltenen Kundenanzahlungen, die sich zum Jahresende auf
30,8 Mio. € (Vorjahr: 17,6 Mio. €) beliefen. Die Erhdhung ist im Wesentlichen
stichtagsbedingt. Dartber hinaus sind auch die sonstigen Ruckstellungen von
3,6 Mio. € im Vorjahr auf 5,9 Mio. € zum Jahresende angestiegen. In dem Betrag
sind 2,0 Mio. € Ruckstellungen fur Verpflichtungen enthalten, die im Zusammenhang
mit der Restrukturierung des Permanent Bond Cluster Bereichs stehen. Auch die
kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten haben sich um 0,9 Mio. € auf 1,2 Mio. € erhoht.
Hier zeigt sich der kurzfristige Teil des neu aufgenommenen Darlehens, das der
Grundsticksfinanzierung Garching dient. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen haben sich hingegen stichtagsbedingt um 1,3 Mio. € auf 5,6 Mio. €
verringert.

Das Eigenkapital des SUSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember
2012 um 17,8 Mio. € auf 109,4 Mio. € verringert. Die Eigenkapitalquote sank im
Jahresvergleich von 70,5% auf 60,8 %. Die fur das Vorjahr angegebenen Werte
beziehen sich auf das Eigenkapital, das sich durch die retrospektive Anpassung der
Vorjahreswerte aufgrund der erstmaligen Anwendung von IAS 19 (2011) ergeben hat.
Die retrospektive Anpassung ist unter Punkt 2 D des Konzernanhangs detailliert
erlautert.

Die Umsatz- und Ergebnissituation von SUSS MicroTec hat sich im Berichtsjahr
negativ dargestellt. Der SUSS MicroTec-Konzern hat ein EBIT von minus 19,4 Mio. €
erzielt.

Die Net Cash-Position des Konzerns hat sich jedoch verbessert. Der Net Cash-
Bestand des Konzerns betrug zum Ende des Geschaftsjahres 35,7 Mio. € (Vorjahr:
32,3 Mio. €). Dadurch verflugt der Konzern tber ausreichend finanziellen Spielraum,
um Investitionen in neue Produktentwicklungen zu forcieren sowie andere
strategische Aktivitaten zu finanzieren.

In 2013 hat die SUSS MicroTec AG das Betriebsgrundstiick am Firmenhauptsitz in
Garching erworben. Dort hat neben der SUSS MicroTec AG auch die SUSS
MicroTec Lithography GmbH ihren Sitz. Die Anschaffungskosten fir das Grundsttick
und die Betriebsgebaude beliefen sich (inklusive Erwerbsnebenkosten) auf
insgesamt 8,9 Mio. €.

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in technische
Anlagen und Maschinen keine wesentliche Komponente in der Unternehmens-



entwicklung. Die wesentliche Wertschopfung entsteht durch Design, Montage und
Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Fir diese
Tatigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem
Bereich von ca. 1 bis 2 % des -Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur
die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser
Produktlinie  wird Kleinserienfertigung betrieben, flir die entsprechende
Fertigungsmaschinen notwendig sind. Um diesen Bereich weiter auszubauen, ist die
SUSS MicroOptic S.A. (Neuchatel / Schweiz) im zweiten Halbjahr 2012 in neue
gemietete GeschaftsrAume umgezogen und hat in diese neuen R&aume einen
Reinraum eingebaut sowie Betriebs- und Geschaftsausstattung neu angeschafft. Seit
Mitte 2012 sind hierfiir Kosten von insgesamt rund 3,0 Mio. € aufgelaufen.

Fur Entwicklungsleistungen, die nach IFRS die Voraussetzungen zur Aktivierung
erfullen, werden immaterielle Vermégenswerte erfasst. Ein Teil der Investitionen ist
daher dem Bereich immaterielle Vermbégenswerte zuzuordnen.

Im Vorjahr sind dem Konzern durch die Akquisition Tamarack Scientific (nun: SUSS
MicroTec Photonic Systems) immaterielle Vermdgenswerte und Sachanlagen von
insgesamt rund 4,2 Mio. € zugegangen. SUSS MicroTec Photonic Systems ist in
Corona (Kalifornien/USA) in gemieteten Raumen angesiedelt und betreibt seine
Wertschopfungskette  ahnlich wie die bereits zur SUSS MicroTec-Gruppe
gehdrenden Produktionsunternehmen. Somit sind auch fir die Produktion der
Photonic-Systems-Maschinen keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Fiihrung des SUSS MicroTec-
Konzerns. Sie Ubernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung,
beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und
Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding fiir Corporate Identity,
Investor Relations und Marketing verantwortlich. Dariiber hinaus Ubernimmt die
Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der
operativen Tochtergesellschaften.

Die SUSS MicroTec AG ist alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an
Tochterunternehmen und deren Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding
als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Markte abhangig.
Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefahigen
Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Vermietung der Geb&ude an den
Standorten Garching und Sternenfels an Tochtergesellschaften, durch Zinsertrage
aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende
Ergebnisabfihrungsvertrage.



Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding (in T€)

Gesellschaft SMTAG (.HGB) :
2013 2012 Anderung in %

Jahrestberschuss / -20.601 7595  -28.196 --
Jahresfehlbetrag

Eigenkapital 89.159 109.760] -20.601 -19%
Bilanzsumme 132.869 127.264 5.605 4%
EK Quote in % 67% 86%

Anlagevermdgen 88.336 76.816 11.520| 15%
...% der Bilanzsumme 66% 60%

Umlaufvermégen incl. RAP 44.534 50.448 -5.914| -12%
...% der Bilanzsumme 34% 40%

WESENTLICHE VERANDERUNGEN DER VERMOGENS- UND FINANZLAGE

Die immateriellen Vermbgensgegenstande sanken im abgelaufenen Geschéftsjahr
um 0,1 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 1,4 Mio. €. Der Rickgang beruht
ausschlief3lich auf planméafigen Abschreibungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf
53,2 Mio. € und sind damit um 4,0 Mio. EUR geringer als im Vorjahr. Grund fiir den
Ruckgang sind aufRerplanmalige Abschreibungen auf die Beteiligung an der SUSS
MicroTec, Inc., Sunnyvale (USA). Durch die Anderung des Geschéaftsmodells wird
die Gesellschaft zuklnftig lediglich eine fur eine Vertriebsgesellschaft Gbliche EBIT-
Marge erzielen. Entsprechend zeigt das zur Uberpriifung der Werthaltigkeit von
Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an
dieser Gesellschaft um rund 4,0 Mio. € an.

Der Anstieg der Ausleihungen an verbundene Unternehmen um rund 6,5 Mio. €
resultiert Uberwiegend aus einer Aufstockung eines Darlehens, das der SUSS
MicroTec Photonic Systems Inc., Corona (USA) gewahrt wurde.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen sanken um
16,7 Mio. €. Der Ruckgang resultiert im Wesentlichen aus dem Effekt aus dem
Cashpooling und der Ergebnisabfiihrung der SUSS MicroTec Lithography GmbH
sowie aus der Verédnderung von Intercompany-Forderungen gegen die SUSS
MicroTec KK, Yokohama (Japan).

Im Berichtsjahr stieg die Liquiditatsposition der SUSS MicroTec AG deutlich. Der
Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der tber das
Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften. Der Anstieg
der Liquiditatsposition wird im Zuwachs der Guthaben bei Kreditinstituten in Hohe
von 19,8 Mio. € sichtbar. Im Gegenzug ist der Bestand an Wertpapieren um rund
9,1 Mio. € zuriickgegangen. Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen
um  Unternehmens- und  Staatsanleihen, die Uber ein Rating im
Investmentgradebereich verflgen.



Die Verbindlichkeiten gegeniber verbundenen Unternehmen stiegen im Berichtsjahr
um 19,8 Mio. €. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Verlustibernahme
der SUSS MicroTec Lithography GmbH (aufgrund des bestehenden Ergebnis-
abfuhrungsvertrages) sowie aus Veranderungen der Intercompany-Verbindlichkeiten
gegentuber der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG.

Die Verbindlichkeiten gegentber Kreditinstituten erhéhten sich im Verlauf des Jahres
2013 um 7,3 Mio €. Der Anstieg resultiert aus einem neu aufgenommenen
Bankdarlehen zur Finanzierung des Betriebsgrundstiickes in Garching in H6he von
7,5 Mio. €. Gegenlaufig wirkten sich die planmaligen Tilgungen eines Darlehens zur
Finanzierung des Betriebsgrundstiicks in Sternenfels aus.

Der Ruckgang des Eigenkapitals um 20,6 Mio. € ist ausschlieBlich auf den
Jahresfehlbetrag des Geschaftsjahres von 20,6 Mio. € zuriickzufuhren.

WESENTLICHE EREIGNISSE MIT EINFLUSS AUF DIE ERTRAGSLAGE DER
HOLDING

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SUSS MicroTec AG ergab sich fir das
Geschaéftsjahr 2013 ein Jahresfehlbetrag von 20,6 Mio. € (Vorjahr: Jahrestiberschuss
7,6 Mio. €).

Auf Grund des zum 01. Januar 2011 gultigen Ergebnisabfiihrungsvertrages mit der
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Aufwand
aus Verlustibernahme in Hohe von 18,2 Mio. € (Vorjahr: Ertrag aus Gewinn-
Ubernahme 6,6 Mio. €) aufwandswirksam erfasst. Zudem wurde eine Wert-
berichtigung auf den Beteiligungsansatz der SUSS MicroTec, Inc. von 4,0 Mio. €
gebucht.

Gegenlaufig wirkte sich ein Ertrag aus Gewinnubernahme von 0,8 Mio. € (Vorjahr:
0,5 Mio. €) aus, der auf Grund des im Geschaftsjahr 2008 geschlossenen
Ergebnisabfihrungsvertrages mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH,
Oberschleissheim, vereinnahmt wurde. Dariber hinaus hat die Holding aus einer
Dividendenausschittung der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu
(Taiwan) Beteiligungsertrage von rund 0,7 Mio. € erzielt.

In den sonstigen betrieblichen Ertragen sind tUberwiegend Fremdwahrungsgewinne
in Hohe von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) und Mieterlose in H6he von 1,5 Mio. €
(Vorjahr: 1,1 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen Dbetrieblichen Aufwendungen enthalten — neben laufenden
Aufwendungen fur die Verwaltung — Fremdwahrungsverluste in H6he von 0,6 Mio. €
(nach 2,0 Mio. € im Vorjahr).

Die Zinsaufwendungen sanken im Geschéftsjahr um 0,5 Mio. €, was im
Wesentlichen auf das im Dezember 2012 zuriickgefiihrte Schuldscheindarlehen und
den damit verbundenen Zinsen zurickzufihren ist. Das neu aufgenommene
Bankdarlehen in H6he von 7,5 Mio. € wurde erst im Dezember 2013 valutiert und
ausgezahlt, so dass darauf im abgelaufenen Geschaftsjahr nur geringe
Zinsaufwendungen entfielen.

In der SUSS MicroTec AG waren im Geschaftsjahr 2013 durchschnittlich 20 (Vorjahr:



20) Mitarbeiter tatig.

Die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SUSS MicroTec AG hangt vor allem von
der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab.
Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend fur die
Hohe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und fir die
Ausschittung und Abfihrung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem ist
das Ergebnis beeinflusst von Fremdwahrungseffekten, die sich aus der Veranderung
der Wechselkurse von USD und JPY ergeben.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen
Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im
technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte langer als ein
Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung
Grundvoraussetzungen fur die Erhaltung bestehender und fir die Anwerbung
qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschaftsjahres 2013 waren 655 (Vorjahr: 704) Mitarbeiter im
Konzern beschaftigt.

Im Geschéaftsjahr 2013 ergaben sich keine wesentlichen Geschafte mit
nahestehenden Personen, die den Angabepflichten nach IAS 24 unterliegen.

Ubernahmerechtliche Angaben

1. ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN KAPITALS

Zum 31. Dezember 2013 belief sich das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf
19.115.538,00€ (Vorjahr: 19.115.538,00€). Das Grundkapital ist in 19.115.538
(Vorjahr: 19.115.538) auf Namen lautende, nennwertlose Stiickaktien unterteilt, auf
die ein anteiliger Betrag von 1,00 € je Aktie entfallt. Die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie
gewahrt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist mal3gebend fur den Anteil
der Aktionare am Gewinn der Gesellschaft. Die Rechte und Pflichten der Aktionare
ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, insbesondere aus den
8812, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG.



Gemalk 8§67 Abs. 2 AktG gilt im Verhaltnis zur Gesellschaft als Aktionar nur, wer als
solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktion&re haben der Gesellschaft die
zur FUhrung des Aktienregisters erforderlichen Daten zu Ubermitteln.

2. BESCHRANKUNGEN, DIE STIMMRECHTE ODER DIE UBERTRAGUNG VON
AKTIEN BETREFFEN

Beschrankungen, die Stimmrechte oder die Ubertragung von Aktien betreffen,
bestehen nach der Satzung nicht. Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen
derartiger Vereinbarungen zwischen Aktionaren.

3. BETEILIGUNGEN AM KAPITAL, DIE 10 % DER STIMMRECHTE
UBERSCHREITEN

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10% der
Stimmrechte erreichen oder tUberschreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch
nicht bekannt.

4. AKTIEN MIT SONDERRECHTEN, DIE KONTROLLBEFUGNISSE VERLEIHEN
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

5. ART DER STIMMRECHTSKONTROLLE, WENN ARBEITNEHMER AM
KAPITAL BETEILIGT SIND UND IHRE KONTROLLRECHTE NICHT
UNMITTELBAR AUSUBEN

Soweit die SUSS MicroTec AG im Rahmen ihres Mitarbeiteraktienprogramms Aktien
an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar tbertragen.
Die begunstigten Mitarbeiter konnen die ihnen aus den Mitarbeiteraktien
zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktiondre unmittelbar nach Maligabe der
gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung austben.

6. GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND BESTIMMUNGEN DER SATZUNG
UBER DIE ERNENNUNG UND ABBERUFUNG VON VORSTANDSMITGLIEDERN
UND DIE ANDERUNG DER SATZUNG

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in den 88 84
und 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf
hochstens funf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlangerung der
Amtszeit, jeweils fiur hochstens funf Jahre, ist zulassig. Uber die Bestellung und
Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschliel3t der Aufsichtsrat mit der einfachen
Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemaR § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Personen,
wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der
Aufsichtsrat kann gemaf’ § 84 AktG und 8§87 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden
bzw. Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw.
Sprecher ernennen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied nach 885 AktG in
dringenden Féallen auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat
kann gemall 8§84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die
Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt.



Eine Anderung der Satzung bedarf nach §179 AktG eines Beschlusses der
Hauptversammlung. Die Befugnis zu Anderungen, die nur die Fassung betreffen, ist
gemal 817 Abs. 3 der Satzung dem Aufsichtsrat Ubertragen.

Satzungsandernde Beschliisse der Hauptversammlung bedirfen nach 88 133 und
179 AktG in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Satzung der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung
vertretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine grof3ere Mehrheit
vorschreibt.

7. BEFUGNISSE DES VORSTANDS, AKTIEN AUSZUGEBEN ODER
ZURUCKZUKAUFEN

Der Vorstand ist erméchtigt, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu
insgesamt 6.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen Stiickaktien
gegen Bareinlagen zu erhdhen. Der Vorstand ist ferner ermachtigt, mit der
Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das
Bezugsrecht der Aktionare auszuschliel3en.

Weiterhin ist der Vorstand ermachtigt, in der Zeit bis zum 18. Juni 2018 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrfach um bis zu insgesamt 2.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.500.000
neuen auf den Namen lautenden Stiickaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhéhen. Der Vorstand ist ferner ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und
unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktiondre
auszuschliel3en.

Der Vorstand ist dartber hinaus erméachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis
zum 18. Juni 2018 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des bei der
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals in H6he von 19.115.538,00 € zu
erwerben. Auf die erworbenen Aktien dirfen zusammen mit anderen eigenen Aktien,
die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach 88 7l1a ff. AktG
zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen.
Die Ermachtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgetbt
werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstandes uber die Borse oder mittels
eines an alle Aktionére gerichteten offentlichen Kaufangebotes bzw. einer an alle
Aktionare gerichteten offentlichen Aufforderung an die Aktionare zur Abgabe eines
Verkaufsangebotes erfolgen. Der Vorstand wird ermdachtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die aufgrund dieser Ermachtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen
gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.

8. WESENTLICHE VEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE UNTER DER
BEDINGUNG EINES KONTROLLWECHSELS INFOLGE EINES
UBERNAHMEANGEBOTS STEHEN

Mit den drei Banken des bestehenden Konsortiums bestehen unter einem
gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhaltnisse, die hinsichtlich
ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthalt ein
Kreditverhaltnis ein auBerordentliches Kiindigungsrecht, falls eine Anderung der
Gesellschaftsverhéltnisse / ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien
keine rechtzeitige Einigung Uber die Fortsetzung zu gegebenenfalls verdnderten



Konditionen, z.B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger
Absprachen, erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SUSS MicroTec AG, die unter der
Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Ubernahmeangebots stehen,
bestehen nicht.

9. ENTSCHADIGUNGSVEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE FUR
DEN FALL EINES UBERNAHMEANGEBOTS MIT VORSTANDSMITGLIEDERN
ODER ARBEITNEHMERN GETROFFEN SIND

Entschadigungsvereinbarungen o. a. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des
Vorstands fir den Fall eines Ubernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezuglich der mit den
Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontroliméglichkeiten,
weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder
Ubertragungsbeschrankungen. Uber die gesetzlichen Regelungen hinausgehende
Vorschriften Gber die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind
nicht vorhanden. Wesentliche Geschaftsbereiche oder Aktivitdten der
SUSS MicroTec AG konnen im Fall eines Ubernahmeangebots durch vorliegende
»,Change-of-Control“-Klauseln nicht wegfallen.

Erklarung zur Unternehmensfiihrung gemald § 289a HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG haben mit Datum vom
4. Marz 2014 eine gemeinsame Erklarung zur Unternehmensfiihrung nach 8289a
HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter

> |nvestor Relations > Corporate Governance > Erklarung zur Unternehmensfiihrung
allgemein zuganglich gemacht.

Vergutungsbericht

SUSS MicroTec legt die Vorstandsvergutung bereits seit mehreren Jahren
individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergiitung bei SUSS ist es,
einen Anreiz fur die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmens-
fuhrung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergitet werden, aber
auch Zielverfehlungen missen zu einer spurbaren Verringerung der Vergutung
fuhren, dariber hinaus muss sich die Vergitung an der Grof3e und der wirtschaft-
lichen Lage des Unternehmens orientieren.

Fur die Festlegung der Vorstandsvergutung ist der Aufsichtsrat zustandig. Das
Aufsichtsratsplenum beschliel3t und Uberpruft auf regelméafliger Basis das Ver-
gutungssystem fir den Vorstand und beschliel3t tGiber die Vorstandsvertrage.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergitung an
einer nachhaltigen Unternehmensfiihrung befasst. Hierzu wurde auch ein externer
Vergutungsberater hinzugezogen.



VERGUTUNGSSTRUKTUR
Die Gesamtvergutung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhangigen
und erfolgsbezogenen Vergitungsbestandteilen.

FESTE VERGUTUNG

Die Hohe der Festbeziige wird in erster Linie von der ubertragenen Funktion bzw.
der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabh&ngigen Teile der Vergutung bestehen
aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und
Zuschissen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung.
Daruber hinaus sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-,
Berufsunfahigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen
(Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.

ERFOLGSBEZOGENE VERGUTUNG
Die erfolgsbezogene Vergitung besteht aus einer variablen Vergitung. Bis zum
Ende des Geschaftsjahres 2012 bestand zudem eine aktienbasierte Vergitung.

VARIABLE VERGUTUNG

Die variable Vergutung kann seit dem 1. Januar 2012 hochstens 150 % der
Festvergitung zu Beginn des betreffenden Geschaftsjahres betragen. 70 % der
variablen Vergutung bestimmen sich nach Jahreszielen und 30% nach
Mehrjahreszielen.

AN JAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE -VERGUTUNG (VARIABLE
VERGUTUNG A)

Die Jahresziele (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow) werden fur
jeweils ein Geschéaftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70 %
oder weniger erreicht, entféllt diese Vergutungskomponente. Bei einer Zielerreichung
von 130 % ist der Maximalbetrag erreicht. Betragt der Zielerreichungsgrad fur ein
bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 130 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an
der variablen Vergutung im Verhaltnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an Jahreszielen orientierte Vergitung wird jahrlich ermittelt. Im Interesse einer
Forderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstands-
mitgliedern aber nur die Halfte der variablen Vergttung A endgiltig zu. In Bezug auf
die andere Halfte des Auszahlungsbetrages (“Vorbehaltshalfte) ist das Vorstands-
mitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des
Auszahlungsbetrages Aktien der Gesellschaft zu erwerben und fir eine Sperrfrist von
drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien
erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten.

AN MEHRJAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE -VERGUTUNG (VARIABLE
VERGUTUNG B)

30 % der variablen Vergttung entfallen auf mehrjahrige Ziele, die fir einen Zeitraum
von regelmaliig drei Geschéftsjahren festgelegt werden.

Erstmalig erfolgte eine Festlegung der Mehrjahresziele fur die Geschaftsjahre 2010
bis 2012. Dabei wurden fir die jeweiligen Geschéaftsjahre Zwischenziele
(,Milestones*) definiert, die in den einzelnen Geschéftsjahren erreicht werden sollten.
Der Aufsichtsrat legte nach Abschluss eines Geschaftsjahres und nach Anhérung



des Vorstandes durch Beschluss den Zielerreichungsgrad in Bezug auf die fur die
Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones zwischen 70 % und 130 % vorlaufig fest.
Abhangig vom festgelegten Zielerreichungsgrad fur die jeweiligen Milestones wurde
der Anteil an der variablen Vergitung fir das jeweilige Geschaftsjahr festgelegt.
Dieser Anteil wurde zu 50% als Vorschuss ausgezahlt und zu 50% auf das
Verrechnungskonto fur die variable Vergutung als vorlaufiges Guthaben vorgetragen.
Nach Ablauf der Gesamtlaufzeit der mehrjahrigen Ziele stellte der Aufsichtsrat fur
diese Ziele insgesamt in einer Bandbreite von 70% bis 130% den Grad der
Zielerreichung fir die jeweiligen Ziele abschlieBend fest. Fir die endgultige
Berechnung der variablen Vergutungsanteile fur die in die Gesamtlaufzeit fallenden
Geschéftsjahre waren nur diese abschlieBend festgestellten Zielerreichungsgrade
maf3geblich, bezogen auf den Mittelwert der Maximalbetrage der betreffenden
Geschaéftsjahre. Die zuvor festgestellten Zielerreichungsgrade hinsichtlich der Mile-
stones dienten nur der Bemessung der entsprechenden Vorschusszahlung.

Fur die Geschéaftsjahre 2013 bis 2015 erfolgte die erneute Festlegung von
Mehrjahreszielen (EBIT-Marge) fur drei Geschéftsjahre im Voraus. Werden diese
Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfallt diese Vergutungskomponente. Bei einer
Zielerreichung von 150% ist der Maximalbetrag erreicht. Betragt der
Zielerreichungsgrad fur ein bestimmtes Ziel zwischen 70% und 150 %, ist der
entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergltung im Verhaltnis zum
Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Die an Mehrjahreszielen orientierte variable
Vergutung B wird jahrlich ermittelt und fir das jeweilige Geschéftsjahr vollstandig
ausgezahlt.

ABFINDUNGEN

In Vorstandsvertragen ist fur den Fall, dass die Vorstandstatigkeit ohne wichtigen
Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal
zwei Jahresvergitungen einschliel3lich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap)
und vergutet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages.
Eine Zusage fur Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der
Vorstandstatigkeit infolge eines Kontrollwechsels (,Change-of-control“-Regelung) ist
in den bestehenden Vorstandsvertragen nicht enthalten.

Fur die Mitglieder des Vorstandes wurde folgende Vergutung fur das Geschéftsjahr
2013 festgesetzt:

Vorstand Grundgehalt |Variable Sonstige Aufwand far
in €* Vergltung Leistungen | Altersversorgung
in € in €** in €
Frank Averdung| 316.929,60 | 128.089,73 6.577,20 2.148,00
Michael Knopp | 250.226,32 | 98.202,12 6.577,20 2.148,00




Fur die Mitglieder des Vorstandes wurde folgende Vergitung fir das
2012 festgesetzt:

Geschaftsjahr

Vorstand Grundgehalt |Variable Sonstige Aufwand far
in € Vergltung Leistungen | Altersversorgung
in € in €% in €
Frank Averdung| 316.794,24 | 398.046,17 6.585,60 2.148,00
Michael Knopp | 237.559,80 | 300.193,44 6.585,60 2.148,00
* Im Grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschisse zur Krankenversicherung sowie ein

Firmenwagen mit privater Nutzungsmaoglichkeit
** Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung

Ergénzend verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

PENSIONEN
Es bestehen keine Pensionsriickstellungen fur Mitglieder oder ehemalige Mitglieder
des Vorstandes (Vorjahr: 35 Tsd. €).

Die Vergitung des Aufsichtsrats ist in §19 der Satzung der SUSS MicroTec AG
geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von
1.500,00€ pro Sitzung erhdlt jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergitung, die
sich an der Verantwortung und dem Tatigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder
orientiert. Demnach erhalt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00€, sein
Stellvertreter 40.000,00€ und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 €
pro Geschéftsjahr als feste Vergutung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der
Gesellschaft den rechnerischen pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten
D&O-Versicherungspramie erstattet.



Aufsichtsratsvergitung 2013

Aufsichtsrat Vergltung | Sitzungsgeld | Abzug fir anteilige
in € in € D&O Versicherungs-
pramie in €
Dr. Stefan Reineck 45.000,00 |10.500,00 1.914,82
(Aufsichtsratsvorsitzender)
Jan Teichert 40.000,00 |10.500,00 957,41
(Stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender)
Gerhard Pegam 35.000,00 |10.500,00 638,27
Aufsichtsratsvergitung 2012
Aufsichtsrat Vergltung | Sitzungsgeld | Abzug flr anteilige
in € in € D&O Versicherungs-
pramie in €
Dr. Stefan Reineck 45.000,00 |10.500,00 1.914,82
(Aufsichtsratsvorsitzender)
Jan Teichert 40.000,00 |10.500,00 957,41
(Stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender)
Gerhard Pegam 35.000,00 |10.500,00 638,27

Im Geschaftsjahr 2013 haben weder die ausgeschiedenen noch die aktuellen
Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergutung bzw. Vorteile fur personlich erbrachte
Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.



Nachtragsbericht

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die
Vermogens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht
ergeben.

Die Henderson Group Plc, London, UK, hat uns gemal3 § 21 Abs. 1 WpHG am
27. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG,
Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % uberschritten hat
und zu diesem Tag 5,13 % betragt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 %
(982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22
Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr
direkt von der Henderson Horizon Fund — Pan European Smaller Companies Fund
gehalten.

Der Henderson Horizon Fund — Pan European Smaller Companies Fund, London,
UK, hat uns gemald 8 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass der
Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am
23. Januar 2014 die Schwelle von 3 % Uberschritten hat und zu diesem Tag 3,17 %
betragt (606.922 Stimmrechte).

Die Henderson Global Investors (Holdings) PLc, London, UK, hat uns gemald § 21
Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der
SUSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von
5 % Uuberschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % betragt (982.355 Stimmrechte).
Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG
in Verbindung mit 8 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten
werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund — Pan European
Smaller Companies Fund gehalten.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemaf § 21 Abs. 1
WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS
MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 %
Uberschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % betragt (982.355 Stimmrechte). Davon
sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG
zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der
Henderson Horizon Fund — Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Balillie Gifford & Co, Edinburgh, UK, hat uns gemaR § 21 Abs. 1 WpHG am 27.
Februar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SUSS MicroTec AG,
Garching, Deutschland, am 26. Februar 2014 die Schwelle von 3% uberschritten hat
und zu diesem Tag 3,003 % betragt (574.032 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,275%
(243.632 Stimmrechte) nach 8§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,728% (330.400
Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG sowie § 22 Abs. 1 Satz 2 (via
Baillie Gifford Overseas Limited) zuzurechnen.



Berichterstattung tber die voraussichtliche Entwicklung mit
ihren wesentlichen Chancen und Risiken

RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfullung der gesetzlichen
Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit Langem Bestandteil der
Unternehmensfihrung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei
SUSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich
negativ auf die Geschaftsentwicklung auswirken konnen. Auf der Grundlage eines
chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch
nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsétzlich zu vermeiden. Vielmehr
streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter
Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein fiur Risiken sollte nicht die F&ahigkeit
beeintrachtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und
seiner Aktionére zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und
hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einfihrung des Risikomanagement-
Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate
direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikofriherkennungs-System wird im Rahmen der Jahres-
abschlussprufung jahrlich gepruft.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal
jahrlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukiinftige
Entwicklungen eingeht. Aul3erdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit
einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen. Auf Basis dieser Workshops
werden vierteljahrlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen
Wirdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plotzlich auftretende Risiken werden dariber hinaus unverziglich an den
Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur RisikofrUherkennung ist das Qualitdtsmanagement des
Konzerns. An den grol3en Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO
9001 vor, die ein zuverlassiges, prozess- und systemorientiertes Qualitats-
management bestatigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im
Rahmen des Qualitditsmanagements sorgen nicht nur fir Transparenz, sondern sind
mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung fur die
erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.



Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen
Schadenshdhe, wenn keine Gegenmalinahmen ergriffen werden. Auf dieser
Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit
ermittelt, die entsprechende Gegenmal3nahmen bericksichtigt und, wie auch die
Ermittlung der maximalen Schadenshéhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der
Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die
Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12
bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene
Risikoklassen eingeordnet, die sowohl die mogliche Schadenshdhe als auch die
Eintrittswahrscheinlichkeit bericksichtigen. Risiken ab einer Schadenshéhe von
10 Mio.€ - gemessen an der Hohe des Liquiditdtsabflusses — werden als
.obestandsgefahrdend” angesehen.

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Hohe der Bewertung werden abgestuft MalRnahmen
der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das
Risikomanagement stets an der einleitend erwéahnten Maxime eines chancenorien-
tierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmalinahmen wird subsidiar
durchgefiuhrt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind
zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken
verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie
Hilfe von héheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tatigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und
aktuelle Risiken fir das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Uberwachung von
Risiken in geeigneter Weise Malinahmen getroffen, um Entwicklungen, die den
Fortbestand der SUSS MicroTec-Gruppe gefahrden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und
Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess
gemal 8§ 289 Abs. 5 HGB und 8§ 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungs-
prozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der
Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es
dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung
und Uberprufung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem
Ziel der Regelungskonformitat des Konzernabschlusses entgegenstehen kdnnten.
Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewéhrleisten,
dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender
Sicherheit regelungskonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Verantwortung fur die Einrichtung und wirksame Unterhaltung angemessener
Kontrollen (iber die Finanzberichterstattung liegt beim Management der SUSS
MicroTec AG, das zu jedem Geschaftsjahresende die Angemessenheit und
Wirksamkeit des Kontrollsystems beurteilt. Zum 31. Dezember 2013 hat das
Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen Uber die Finanzbericht-



erstattung festgestellt. Allerdings bestehen bei jedem Kontrollsystem gewisse
Einschrankungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit.

Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemessenen und funktionsfahigen
Systemen nicht gewahrleistet werden.

Die SUSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit giiltiges Bilanzierungshandbuch zur
einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsatzen. Durch eindeutige Vorgaben
soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von
Vermogenswerten und Schulden eingeschrankt und somit das Risiko
konzernuneinheitlicher = Rechnungslegungspraktiken  verringert werden. Den
Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfange zwingend
vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die
zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling Gberwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen
Mitarbeitern oder mit der Unterstlitzung von externen Buchfluhrungsfirmen oder
Steuerberatungsgesellschaften durchgefiihrt. Dabei werden unterschiedliche EDV-
Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit
SAP. Seit 2010 wird SAP auch bei der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin
Chu (Taiwan), verwendet. 2011 wurde SAP schlie3lich bei der SUSS MicroTec, Inc.,
Sunnyvale (Kalifornien/USA) implementiert. Das Reporting an die Konzernzentrale
erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssoftware ,INFOR PM Application
Studio®. Die Einzelabschlisse werden schlie3lich tber ein zentrales Konsolidierungs-
system zusammengefuhrt. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung
und des Controllings die OrdnungsméalRigkeit und Verlasslichkeit der von den
Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlisse dberpruft. Kontrollen im
Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der
Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mangel werden
korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurlck berichtet. Die eingesetzten
Finanzsysteme sind durch  entsprechende  Berechtigungskonzepte und
Zugangsbeschrankungen vor Missbrauch geschutzt. Zugriffsberechtigungen werden
regelmafdig tberprift und gegebenenfalls aktualisiert.

ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN UND BRANCHENRISIKEN
Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Unser Geschaftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten
konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Nach einem verhaltenen Start ins Jahr
2013 hat die Weltkonjunktur Mitte des Jahres an Schwung gewonnen. Das weltweite
Bruttoinlandsprodukt ist in 2013 um real 3,0 % gestiegen (nach einem Anstieg um
real 3,1 % im Vorjahr). Auch das weltweite Handelsvolumen hat in 2013 im Vergleich
zum Vorjahr um rund 2,7 % zugelegt. Der deutlichste Anstieg im
Bruttoinlandsprodukt war erneut in den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften
(China, Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand und Vietnam) zu
verzeichnen. Hier wurden fur 2013 Wachstumsraten zwischen 4,4 % und 7,7 %
festgestellt. Auch die Bruttoinlandsprodukte der USA und Japans wuchsen in 2013
um 1,9 % bzw. 1,7 %, wahrend in den Volkswirtschaften des Euro-Raums insgesamt
ein Ruckgang um rund 0,4 % zu verzeichnen war.2

2 Quelle: WEO Update des International Monetary Fund (IMF) vom 21. Januar 2014



Der gesamte Halbleitermarkt ist in 2013 um rund 4,8 % gewachsen. So summierte
sich das Gesamtvolumen im Halbleitermarkt in 2013 auf rund 305,6 Mrd. USD (nach
291,6 Mrd. USD in 2012)3 und erreichte damit ein historisch einmalig hohes Niveau.
Der Markt fur Halbleiter-Equipment wies dagegen erneut einen Riuckgang auf. Semi
hat in seiner Pressemeldung vom Dezember 2013 fur das abgelaufene
Geschaftsjahr ein  Gesamtvolumen von rund 32,02 Mrd. USD prognostiziert,
nachdem in 2012 ein Gesamtvolumen von rund 36,93 Mrd. USD und in 2011 ein
Gesamtvolumen von rund 43,53 Mrd. USD erreicht wurde. In 2013 wird somit im
Halbleiter-Equipment-Markt ein Rickgang um rund 13,3 % erwartet, nachdem bereits
im Vorjahr ein Ruckgang um 15,2 % festgestellt wurde#.

SUSS MicroTec verzeichnete in 2013 einen Umsatzriickgang um rund 18 %. Der
hochste Umsatzanteil wurde wieder in den Regionen China, Taiwan und sonstiges
Asien erzielt. Die Umsatze in diesen Regionen waren jedoch im Vergleich zum
Vorjahr ricklaufig und verzeichneten ein Minus von 14 %. Auch die Umsatze mit
Kunden in den USA reduzierten sich deutlich um 25 %. Der prozentual grofite
Rickgang war jedoch in Japan zu verzeichnen: Die Umsatze mit japanischen
Kunden waren um rund 69 % geringer als im Vorjahr. Lediglich die Umsatze in
Europa lagen etwas Uber Vorjahresniveau. Der Auftragseingang erreichte mit
135 Mio. € ein um 14 % geringeres Niveau als noch in 2012. Mit 29 Mio. € war vor
allem der Auftragseingang des 4. Quartals 2013 unterdurchschnittlich gering.

Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschatzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehort
unverandert zu den groRten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die
Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzméarkten zahlt, ist von starken Marktzyklen
gepragt. Den damit verbundenen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen,
die bei schwacher Geschéaftsentwicklung zligig angepasst und gegebenenfalls durch
Outsourcing erganzt werden kénnen. Die starken Marktzyklen der Halbleiterindustrie
bieten unserem Unternehmen jedoch — je nach Art der Entwicklung — auch
zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig fir einen starken Anstieg der
Auftragseingadnge und Umsatze sorgen kénnen.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs konnten Teile des
Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn
neue Technologien schnellere, effizientere oder giinstigere Losungen fir das gleiche
Problem bieten wirden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte
Forschung und Entwicklung wund durch einen laufenden Abgleich der
Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

Durch unsere langjahrige Erfahrung und unsere Technologiekompetenz werden wir
als Marktfihrer in Mikrostrukturanwendungen wahrgenommen. Wir gehen davon aus,
dass wir auch in Zukunft vom schnellen technologischen Wandel profitieren kbnnen
und durch unsere Neuentwicklungen und durchdachten Prozesslosungen unsere
Marktstellung weiter ausbauen kénnen.

3 Quelle: Semiconductor Industry Association, Pressemeldung vom 3. Februar 2014
4 Quelle: Semi, Pressemeldung vom 3. Dezember 2013



Abhéangigkeit von einzelnen , Knowhow*-Tragern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter
abhéangig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine
Nichtverfugbarkeit dieser Mitarbeiter fur die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko
dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

BETRIEBLICHE RISIKEN

Vermdgens- und Ertragslage

Angesichts des hohen Bestands an flissigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote
und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich fur SUSS MicroTec aus
der aktuellen Vermogens- und Ertragslage ergeben kdnnten, begrenzt. Durch die
vorgenommenen Restrukturierungsmallnahmen im Zusammenhang mit dem
Permanent Bond Cluster Bereich ist das Ergebnis 2013 mit Sonderaufwendungen in
Ho6he von rund 13,2 Mio. € belastet. Aufgrund der Einstellung der Produktion von
Permanent Bond Cluster Systemen s und unter Bericksichtigung der in 2013
vorgenommenen Wertberichtigungen sind aus diesem Bereich zukiinftig keine
weiteren Verluste mehr zu erwarten. Ohne die angefallenen Sonderaufwendungen
wurde das EBIT 2013 rund minus 6,2 Mio. € betragen.

Unter Berucksichtigung des zum Jahresende 2013 vorhandenen Auftragsbestands
und den verhaltenen Aussichten fur die Halbleiter-Equipment-Branche im Jahr 2014
missen wir damit rechnen, auch in 2014 ein negatives Ergebnis zu erzielen.

Zum 31. Dezember 2013 weist SUSS MicroTec einen Goodwill in Hohe von rund
15,3 Mio. € aus, der ausschliel3lich dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Das
Segment Lithografie erwirtschaftet mehr als die Hélfte des Konzernumsatzes und ein
positives Segmentergebnis. Das Segment Lithografie wird auch im nachsten Jahr
mehr als die Haélfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und weiterhin
profitabel sein. Fur Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine
Anzeichen.

Segment Substrat Bonder

Im abgelaufenen Geschéftsjahr war das Segment Substrat Bonder erneut defizitar.
Im Ergebnis des Segments Substrat Bonder sind die Sonderaufwendungen in Hohe
von 13,2 Mio. € im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von
Permanent Bond Cluster Systemen erfasst. Im Einzelnen wurden Abschreibungen
auf aktivierte Entwicklungskosten von 1,2 Mio. €, Wertberichtigungen auf Vorrats-
bestdnde und Kundenforderungen von 9,3 Mio.€ bzw. 0,5Mio.€ sowie
Ruckstellungen fur sonstige Verpflichtungen von 2,2 Mio. € erfasst. Bereinigt um
diese Sondereffekte belief sich das EBIT des Segments Substrat Bonder auf
minus 8,5 Mio. €. In diesem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis sind auch die in
2013 unterjdhrig angefallenen negativen Margen der Permanent Bond Cluster
Systeme enthalten.

Auch in 2014 wird das Segment Substrat Bonder ein negatives Ergebnis erzielen.
Die noch im aktuellen Auftragsbestand abgebildeten Permanent Bond Cluster
Systeme, die in 2014 bei den Kunden installiert werden, werden zwar zum Substrat-
Bonder-Umsatz 2014 beitragen, jedoch keinen Beitrag zur Marge des Segments

5 vgl. Ad-Hoc-Mitteilung der SUSS MicroTec AG vom 6. November 2013



leisten. Die fir das kommende Jahr erwarteten Umséatze fur Temporary Bonding und
De-Bonding werden noch kein hohes Niveau erreichen und damit kein positives
Ergebnis erzielen.

Generell wird die 3D-Integration fur die Volumenproduktion bei unseren Kunden noch
nicht eingesetzt. Zudem besteht das Risiko, dass sich am Markt andere
Technologien und Prozesse durchsetzen werden als die, die von SUSS MicroTec
entwickelt wurden und angeboten werden. Der Erfolg unserer Technologie des
Temporary Bonding und De-Bonding hangt entscheidend davon ab, ob sich die von
uns entwickelten Technologien und Prozesse am Markt durchsetzen und ob sich die
3D-Integration in der industriellen Fertigung fur die Volumenproduktion etablieren
wird. Nur durch den Verkauf hoher Stickzahlen werden wir zukinftig im Segment
Substrat Bonder unsere Margen verbessern und nachhaltig positive Ergebnisse
erzielen kdnnen.

Einstellung von Permanent Bond Cluster Systemen

Mit der Einstellung der Produktion von Permanent Bond Cluster Systemen hat
SUSS MicroTec sein Produktportfolio um eine Produktlinie bereinigt, die in der
Vergangenheit nachhaltig Verluste erzielt und das Konzernergebnis negativ
beeinflusst hat. SUSS MicroTec wird alle Permanent-Bond-Cluster-Systeme, die
momentan noch im Auftragsbestand abgebildet sind, vertragsgemal bei den Kunden
installieren. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Wettbewerbsfahigkeit von SUSS
MicroTec durch diese strategische Mal3nahme negativ beeintrachtigt werden kénnte.
Mdoglicherweise ergeben sich auch negative Auswirkungen auf das Geschéaft mit
unseren anderen Produktlinien. Diesem Risiko begegnen wir, indem wir uns auf
unsere Kernkompetenzen konzentrieren und unsere Kunden mit hoher Qualitat und
hochwertiger Technologie zufriedenstellen.

Segment Lithografie: SUSS MicroTec Photonic Systems

Das Segment Lithografie hat in 2013 ein EBIT von 3,2 Mio. € und damit eine EBIT-
Marge von 3,6 % erzielt. In 2012 konnte noch eine EBIT-Marge von 20,9 % erzielt
werden. Im Segment Lithografie ist seit Marz 2012 auch das Geschaft der SUSS
MicroTec Photonic Systems erfasst, die Produktlinien fir UV-Projektionsbelichtung
und Laser-Prozessierung entwickelt und vertreibt. In 2013 konnte mit diesen
Produktlinien kein positives Ergebnis erzielt werden. SUSS MicroTec Photonic
Systems erzielte in 2013 Umsétze von 11,6 Mio. € und steuerte ein negatives EBIT
von minus 5,1 Mio. € zum Konzernergebnis bei. Darin sind einmalige Ertrdge aus der
Auflésung einer Earn-Out-Verpflichtung in H6he von 2,1 Mio. € enthalten. Aus dem
operativen Geschaft der SUSS MicroTec Photonic Systems resultiert in 2013 somit
ein EBIT von minus 7,2 Mio. €. Ein positiver Ergebnisbeitrag kann mit den Photonic-
Systems-Produktlinien nur erzielt werden, wenn es SUSS MicroTec gelingt, die
Scanner-Systeme erfolgreich am Markt zu platzieren und ein deutlich hoheres
Volumen zu erreichen. Hierfir mussen zunachst aus den momentan laufenden
Evaluierungsprozessen Auftrage gewonnen werden.

Preisdruck

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverandert ein deutlicher Preisdruck. Dieser
beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Markten ursprtingliche
Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden kdnnen. Diesem Risiko begegnen wir
mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch



auf Auftrage, um bei sich erholenden Markten den Kunden gegentber eine
konsistente Preisgestaltung zu gewahrleisten.

Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SUSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und
Qualitatsmanagement regelmafiig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des
Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden
Anforderungen an die Produktqualitdt kann sich das Haftungsrisiko flr
SUSS MicroTec erhohen. SUSS MicroTec verfuigt, neben anderen Versicherungen,
Uber eine Produkthaftpflichtversicherung fur die Gruppe, die das potenzielle Risiko
soweit maglich limitiert.

BETRIEBLICHE CHANCEN

Segment Substrat Bonder

Wir gehen fest davon aus, dass sich bei unseren Kunden in den kommenden Jahren
die 3D-Integration fur die industrielle Fertigung und Volumenproduktion durchsetzen
wird. Mit den von uns entwickelten Technologien und Prozessen fir Temporary
Bonding und De-Bonding sehen wir uns sehr gut gerustet flir die kommenden
Herausforderungen. Sollte die von uns erwartete Entwicklung so eintreten, sehen wir
uns in der Lage, mit unseren Produktlinien im Temporary-Bonding- und De-Bonding-
Bereich einen substantiellen Umsatzbeitrag und — bedingt durch hohe Volumina —
positive Margen zu erzielen.

Segment Lithografie: SUSS MicroTec Photonic Systems

Mit den Technologien der SUSS MicroTec Photonic Systems — der UV-Projektions-
belichtung und der Laser-Prozessierung — haben wir unser Produktportfolio im
Bereich Lithografie erganzt und erweitert. In 2013 haben wir mehrere Laser-Tools
(ELP300) erfolgreich bei Kunden installiert und haben in ungewoéhnlich kurzer Zeit
von den Kunden eine Abnahme ohne Beanstandungen erzielt. Wir sehen die Chance,
in den kommenden Monaten weitere Auftrdge fur Laser-Tools zu gewinnen und
damit die Marktposition der SUSS MicroTec Photonic Systems weiter zu starken.

Die von SUSS MicroTec Photonic Systems ebenfalls entwickelten und produzierten
Scanner-Systeme (DSC300, DSC500) mussen am Markt noch Ful3 fassen. Es gibt
allerdings bereits vielversprechende Anfragen fir diese Systeme. Derzeit evaluiert
einer unserer grollen Kunden intensiv einen DSC300. Sollte dieser
Evaluierungsprozess erfolgreich abgeschlossen werden, erwarten wir weitere
positive Impulse im Marktumfeld und gehen davon aus, dass sich auch andere
Kunden fur diese Technologie entscheiden werden. Damit kdnnten wir in den
nachsten Jahren substantielle Auftragsvolumen und Umsatze mit diesen Systemen
erzielen. Bei entsprechend hohen Stiickzahlen kdnnten zuklnftig nachhaltig positive
Margen erreicht werden.

FINANZMARKTRISIKEN

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Ertrdgen. Dieser
tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der
Falligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermdgenswerte an



Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gultige Richtlinie zum Thema
,Credit Assessment” implementiert. Diese Richtlinie legt fur die einzelnen
Vertriebseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und
Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Bertcksichtigung kunden- und
landerspezifischer Aspekte vereinbart werden. Auftrage mit Kunden, die in
sogenannten ,Risk Countries® angesiedelt sind, kénnen demzufolge nur gegen
Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of
Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sogenannten ,Non Risk
Countries" ansassig sind und eine bestimmte Grdl3enordnung Uberschreiten, wird ein
entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben
externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind fir die
Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -Absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in H6he von
12,9 Mio.€ (Vorjahr: 22,4 Mio.€) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 6,1 Mio. €
(Vorjahr: 15,5 Mio. €) der Forderungen weder Uberféllig noch wertgemindert. Bei
diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2013 keine Anhaltspunkte vor, dass
Zahlungsausfalle eintreten werden.

Die Altersstruktur der Uberfalligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt
sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

2013 2012
Altersanalyse der Uberfalligen Forderungen ohne
Wertberichtigung
1 - 30 Tage 2.232 1.439
31 - 60 Tage 294 458
61 - 90 Tage 1.038 3.636
91 - 180 Tage 226 105
Uberfallige Forderungen ohne Wertberichtigung 3.790 5.638
Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 3,0 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio.€) des

Bruttoforderungsbestands Uberféallig und wertberichtigt. In dem Betrag sind auch
Forderungen von 1,1 Mio. € fur zwei spezielle Kundenprojekte bertcksichtigt, bei
denen die vertraglich zugesicherten Spezifikationen noch nicht erreicht werden
konnten.

Die Altersstruktur der Uberfalligen und wertberichtigten Forderungen zum
Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestelit:

2013 2012

Altersanalyse der Uberfalligen Forderungen mit

Wertberichtigungen

<91 Tage 73 0
91 - 180 Tage 767 368
181 - 360 Tage 1.404 535
> 360 Tage 765 366
Uberfallige Forderungen mit Wertberichtigung 3.009 1.269




Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

Liquiditatsrisiken

Zum Jahresende weist der SUSS MicroTec-Konzern einen Net Cash Bestand von
35,7 Mio. € aus (Vorjahr: 32,3 Mio. €). Der Free Cashflow (bereinigt um Effekte aus
Wertpapiererwerben und Wertpapierverkdufen) belief sich im abgelaufenen
Geschaftsjahr auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: minus 4,5 Mio. €).

Mit Kreditvertrag vom 23. / 28. Oktober 2013 hat die SUSS MicroTec AG bei der IKB
Deutsche Industriebank AG ein Darlehen tber 7,5 Mio. € aufgenommen, das der
Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstiicks in Garching dient und eine
Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 aufweist. Zusammen mit dem bereits bestehenden
Bankdarlehen bei einer lokalen Volksbank, das der Finanzierung des
Betriebsgrundstiicks Sternenfels dient, weist der SUSS MicroTec Konzern zum
31.12.2013 Bankverbindlichkeiten von 11,5 Mio. € aus. Die jahrliche Tilgung fur die
beiden Darlehen wird sich fiir die kommenden Jahre auf 1,2 Mio. € pro Jahr belaufen.
Zudem fallen fur die beiden Darlehen banktbliche Zinsen an.

Derzeit stellen drei Banken der SUSS MicroTec Lithography GmbH im Rahmen
eines Bankenkonsortiums Kredit- und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. €. Diese
Kredit- und Avallinien werden bis auf weiteres gewahrt. Eine weitere Kreditlinie in
Ho6he von 1,0 Mio. € steht der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co.
KG zur Verfigung. DarUber hinaus besteht im Rahmen eines Kautions-
versicherungsvertrages ein weiterer Birgschaftsrahmen in Hohe von 2,5 Mio. €, der
von der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS MicroTec Reman GmbH
genutzt werden kann. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um
Anzahlungsbirgschaften im operativen Geschéft zu stellen. Zum 31. Dezember 2013
sind diese Kredit- und Avallinien lediglich in H6he von 3,3 Mio. € in Form von Avalen
in Anspruch genommen.

Wir gehen fest davon aus, dass wir damit auch zukinftig alle erforderlichen
Anzahlungsburgschaften stellen kdnnen.

Die Minimierung der Abh&angigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll
ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor
allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des
Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten.
Weitere Einzelheiten zur Liquiditatssituation der Gesellschaft finden sich unter
Textziffer (24) des Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen kdnnen fir das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie
Gewinnrisiken zur Folge haben. Anderungen der Fremdwahrungskurse und der
Zinssatze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschaft als auch die
Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SUSS MicroTec ist im Rahmen der gewohnlichen Geschaftstatigkeit aufgrund der
internationalen Ausrichtung Fremdwahrungsrisiken ausgesetzt. Die
Wahrungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwahrungsauftrage. Fur
Auftrdge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, betragt die



Sicherungsquote rund 65% bzw. 45%. Gegenlaufige Zahlungsstrome, die sich
insbesondere aus Fremdwéahrungsbestellungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichernden Fremdwahrungsbetrag
abgesetzt. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschafte genutzt. Fur
weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (30).

Eine ginstige Entwicklung der Fremdwahrungskurse kann zu hdheren Margen
einzelner Auftrage fihren und zusatzliche Kursgewinne generieren.

Die Fremdwahrungssensitivitdt wird durch die Aggregation der Fremdwé&hrungs-
positionen des operativen Geschéafts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei
werden die Fremdwahrungsrisiken durch Simulation einer zehnprozentigen
Abwertung aller Fremdwéahrungen gegeniiber dem Euro berechnet. Diese simulierte
Abwertung hétte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in
Hohe von 114Tsd.€ (Vorjahr: Reduzierung um 217 Tsd.€) und einer
entsprechenden Verringerung (Vorjahr: Verringerung) des Jahresergebnisses geflhrt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwahrungs-
exposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und
zum Vorjahresstichtag:

2013
USD JPY Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente 3.615 609 4.224
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1575 805 2.380
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -1.351 -114 -1.465
Kundenanzahlungen -3.861 -26 -3.887
Netto-Exposure -22 1.274 1.252
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro 2 -116 -114
2012
USD JPY Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente 1.681 1.811 3.492
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.635 544 3.179
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -1.138 -138 -1.276
Kundenanzahlungen -2.851 -156 -3.007
Netto-Exposure 327 2.061 2.388
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro -30 -187 -217

Das Zinsanderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf das variabel
verzinste Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstiicksfinanzierung Sternenfels
ein laufzeitkongruenter Zinsswap gelegt wurde. Urspriinglich variable Konditionen
wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Das Darlehen im Zusammenhang
mit der Grundstticksfinanzierung Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

Das Unternehmen halt festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die zu
jeder Zeit tUiber eine Bank oder tber die Borse veraufRert werden kénnen. Der Kurs ist
unter anderem auch beeinflusst durch das aktuelle Marktzinsniveau. Sollte das
Unternehmen Wertpapiere vor dem Ende der Laufzeit verauf3ern (z. B. zur Deckung



eines ungeplanten Liquiditatsbedarfs, der nicht durch freie Mittel gedeckt werden
kann), konnten ungeplante Kursverluste entstehen.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschaftsjahr 2013 keine bestandsgefahrdenden Risiken
identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und
Liquiditatsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefahrdet.

Insgesamt sehen die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute nach einigen
schwierigen Jahren wieder positiv aus. Seit Mitte 2013 hat sich laut der
.Gemeinschaftsdiagnose 2013“ fihrender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute
die anziehende Konjunktur in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften sehr positiv auf
das Weltwirtschaftsklima ausgewirkt. Die wirtschaftliche Situation in den
Industrielandern wird zwar weiterhin durch die Folgen der Finanzkrise belastet, aber
die Zeichen stehen auf Erholung. In den Schwellenlandern dagegen setzte sich die
Verlangsamung des Wachstums fort und erreichte laut Schatzungen des
International Monetary Fund im Jahr 2013 ein Plus von 4,7 %. Moégliche Griinde
hierfir sind durch anziehende Inflationssorgen steigende Leitzinsen in vielen
Schwellenlandern sowie das Auslaufen verschiedener Konjunkturprogramme in
China. Fur das Gesamtjahr 2013 prognostiziert der International Monetary Fund in
seinem World Economic Outlook ein Weltwirtschaftswachstum um 3,0 %, fur 2014
geht man von einem beschleunigten Wachstum um 3,7 % aus.

Europa wird nach einem moderaten Jahr 2013 voraussichtlich wieder auf den
Wachstumspfad zurtickkehren und das Bruttoinlandsprodukt soll erwartungsgemarfd
um 1,0 % zulegen. Insbesondere die Krisenlander des Euroraumes haben
Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfahigkeit sowie der Umsetzung
von Sparmallnahmen erzielt. Obwohl ein Ende der Euro-Krise weiterhin nicht
abzusehen ist, so scheinen die Anstrengungen zur Krisenbewaltigung erste Frichte
zu tragen. In LaAndern wie Griechenland, Italien oder Spanien, dirften die weiterhin
notigen Anpassungsprozesse einem kraftigen Wirtschaftswachstum im Wege stehen.

Fur Deutschland erwartet der Sachverstandigenrat eine weitere Aufhellung der
konjunkturellen Lage. Nach einem moderaten Wachstum von 0,4 % im Jahr 2013
werden fur 2014 ein Anspringen der Konjunktur und damit ein Wachstum von rund
1,6 % erwartet. Getragen wird dieser Aufschwung insbesondere durch erstarkte
Nachfrageimpulse aus dem Inland. Der erwartete Beschéaftigungsstand ist weiterhin
hoch und das historisch niedrige Zinsniveau erleichtert es den Unternehmen,
kreditfinanzierte Investitionen zu tatigen. Die positiven Konjunkturaussichten spiegeln
sich auch am Aktienmarkt wieder. In Deutschland hat der Leitindex DAX im
Dezember 2013 die 9.500er Marke durchbrochen und neue Rekordstande erreicht.



HALBLEITERINDUSTRIE

Der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschéaftsjahr um 4,8 % gewachsen. Das
Gesamtvolumen wuchs von 291,6 Mrd. USD im Jahr 2012 auf rund 305,6 Mrd. USD
im letzten Jahr (Quelle: Semiconductor Industry Association). Getragen wurde das
Wachstum durch eine starke Nachfrage nach DRAM und NAND Speicherbausteinen
fur die Segmente Smartphones und Tablet Computer. Ohne diese beiden Bereiche
hatte die gesamte Halbleiterindustrie im Jahr 2013 kein Wachstum verzeichnen
kénnen (Quelle: Gartner).

Fur das Geschéftsjahr 2014 erwarten die Analysten der Bank of America einen
erneuten Anstieg der Nachfrage im Halbleitersegment. Der Markt soll nach rund funf
Prozent im Jahr 2013 um mehr als zehn Prozent im Jahr 2014 wachsen. Die
wesentlichen  Wachstumstreiber werden  weiterhin  Speicherelemente  flr
Smartphones und Tablet Computer, aber auch Bausteine fur Logik- und analoge
Anwendungen sein. Der PC-Markt wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2014
verhalten entwickeln und lediglich ein Wachstum von rund zwei Prozent erreichen.

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prognosegenauigkeit
aufgrund der Besonderheiten und der ausgepragten Zyklizitat im Halbleiterbereich
sehr begrenzt, so unterscheiden sich die Schatzungen der Marktforschungsinstitute
zum Jahresende 2013 deutlich von den eigenen Schatzungen zum Jahresanfang.
Vor diesem Hintergrund stellen die nun folgenden Ausfiihrungen Einschatzungen dar,
die auf Basis der zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfugung stehenden Informationen
getroffen wurden, aber keine Garantie fiir das tatsachliche Eintreten der Prognosen
bieten.

HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

Der Branchenverband semi hat in einer Analyse des Auftragsverhaltens im
Equipment-Bereich festgestellt, dass grof3e Investitionen in Kapazitatserweiterungen
und der Aufbau neuer Fabriken in den letzten beiden Jahren eher schwach
ausgepragt war. Derzeit bewegt man sich auf einem niedrigen Investitionsniveau, wie
es in Zeiten der Finanzkrise um das Jahr 2009 der Fall war. Investitionen werden
Uberwiegend fur Upgrades an bestehenden Produktionslinien vorgenommen. Neben
der weiterhin vorherrschenden Marktunsicherheit sind die deutlich angestiegenen
Kosten, die bei einem Aufbau neuer Fabriken entstehen, ein moglicher Grund fur ein
zdgerliches Investitionsverhalten.

Der Markt fur Halbleiter Equipment wies entsprechend erneut einen Rickgang aus.
Im Jahr 2013 ist laut Gartner die Nachfrage nach Halbleiter Equipment insgesamt um
rund 8,5 % gegenuber Vorjahr gesunken (2012: minus 16,1%). Marktforscher Gartner
erwartet nach zwei schwierigen Jahren mit rtcklaufigem Geschéftsvolumen einen
Anstieg der Nachfrage nach Halbleiter EqQuipment um 15,8 % im Jahr 2014. Fir 2015
erwartet Gartner ein weiteres Wachstum um 17,0 %. Ein erheblicher Anteil der
Nachfrage wird aus Taiwan, Korea sowie der Region Nordamerika kommen.



ERWARTETE ENTWICKLUNG IN DEN HAUPTMARKTEN

MARKT FUR MIKROSYSTEMTECHNIK (MEMS)

Mit dem deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen fur Smartphones und Tablet
Computern sowie mobilen Navigationsgeraten hat sich die Nachfrage nach MEMS-
Sensoren, insbesondere Gyroskopen, Beschleunigungssensoren und elektronischen
Kompassen, in den letzten Jahren spirbar erhdoht und wird auch zukinftig weiter
ansteigen. Einen weiteren vielversprechenden Wachstumsbereich stellen die MEMS-
Mikrofone dar. Laut dem Marktforschungsinstitut Yole verwenden hochwertige
Smartphones mittlerweile bis zu drei MEMS-Mikrofone, dazu gehdren neben der
klassischen Mikrofonfunktion Anwendungen wie Spracherkennung oder Gerausch-
unterdriickung. Auch in Spielekonsolen und anderen Konsumelektronikgeraten
kommen verstarkt MEMS-Bausteine zum Einsatz.

Die Grafik zeigt deutlich, dass sich der Bereich Konsumelektronik bisher am
dynamischsten entwickelt hat und auch zukinftig der grof3te Anwendungsbereich
sein wird. Yole schatzt das durchschnittliche jahrliche Wachstum des gesamten
MEMS-Marktes in den Jahren 2012 bis 2018 auf Uber 20 %. Bei der Interpretation
der Marktzahlen ist allerdings zu bertcksichtigen, dass der Equipment-Markt in
diesem Bereich weniger schnell wéachst, als der MEMS-Markt selbst, da durch die
gesteigerte Produktivitat der Fertigungssysteme eine stets hohere Anzahl an MEMS-
Bauteilen pro Maschine gefertigt werden kann.

In Millionen Einheiten, Quelle: Yole 2013
(Excel Daten in separater Datei verfugbar)
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ADVANCED PACKAGING UND 3D-INTEGRATION

Laut Aussage des Branchenverbands Semi werden aktuell rund 80 % aller
Mikrochips Uber das herkdmmliche Verdrahten (Wire Bonding) mit der Aul3enwelt
verbunden. Die verbleibenden 20 % der Chips werden Uuber sogenannte
fortschrittliche Verpackungstechnologien (Advanced Packaging) mit der AulRenwelt
verbunden. Neben kirzeren Verbindungswegen und einer hoheren Verbindungs-
geschwindigkeit, ist ein weiterer Vorteil der geringere Platzverbrauch, welcher bei



Smartphones und Tablet Computern eine wichtige Rolle spielt. Ohne Advanced
Packaging-Technologien kénnten dartber hinaus die schlanken Formfaktoren von
Smartphones und Tablet Computern nicht dargestellt werden.

Unter den Advanced Packaging-Technologien subsummiert man heute verschiedene
Technologien, wie beispielsweise das Wafer-Level-Packaging (Kontaktierung findet
statt, wahrend die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer befinden) mit seinen
Unterformen fan-in und fan-out, Flip Chip-Bonding, Wafer-Level-Chip-Scale-
Packaging sowie die 2,5D Integration und die 3D Integration. SUSS MicroTec ist
insbesondere mit seinen Lithografie- und Temporary Bonding-Losungen in diesem
Feld aktiv.

Die Flip Chip Verpackungstechnologie hat in den letzten Jahren bereits eine sehr
dynamische Entwicklung vollzogen und ist fir SUSS MicroTec ein sehr bedeutendes
Marktsegment. Marktforscher von Yole Developpement erwarten auch zuklnftig
nennenswertes Wachstum in diesem Bereich.

In Millionen Einheiten, Quelle: Yole Februar 2013
(Excel Daten in separater Datei verfugbar)
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Die 3D Integration ist eine Weiterfuhrung der heute im Volumen eingesetzten
Verpackungstechnologien, hierbei werden gediunnte Mikrochips Ubereinander
gestapelt und durch sogenannte TSVs (Thru Silicon Vias) miteinander verbunden.
Die entscheidenden Vorteile sind die hohe Packungsdichte und die enorme
Komplexitat, die auf kleinstem Raum erreicht werden kann. Durch die 3D Integration
ist es zudem mdoglich verschiedene Funktionalitdten, wie beispielsweise Speicher
und Prozessor, in einem Package zu vereinigen. Bisher fanden diese Prozesse
ausschlieRlich im forschungsnahen Umfeld statt. Im Jahr 2013 ist es SUSS MicroTec
jedoch gelungen, den weltweit ersten Auftrag fur Geréate zur Pilotproduktion von
gestapelten Chips zu verbuchen. Der Kunde wird 2014 mit der Pilotserienproduktion
sowie der Prozessoptimierung beginnen. Nach Abschluss dieser Phase erfolgt
ublicher Weise der Ubergang zur Volumenproduktion, wie schnell dieser Ubergang
erfolgen wird ist allerdings zum heutigen Zeitpunkt sehr schwer zu prognostizieren.



VERBINDUNGSHALBLEITER LED (LEUCHTDIODEN)

SUSS MicroTec konzentriert sich im Markt fiir Verbindungshalbleiter auf das
Wachstumssegment LEDs (Leuchtdioden) und adressiert mit seinen
Produktlosungen insbesondere Hersteller von hoherwertigen Leuchtdioden,
sogenannte High-Brightness (HB)- und Ultra-High-Brightness (UHB)-LEDs.

Im Prognosebericht 2012 haben wir von der Erwartung, dass die Umséatze mit LEDs
ab 2013 wieder steigen, berichtet. Ruckblickend lasst sich festhalten, dass das
Marktvolumen von 2012 auf 2013 deutlich angestiegen ist und dass die Schatzungen
fur 2014 einen weiteren Wachstumsschub vorhersagen (siehe Grafik).

Marktvolumen Packages LEDs in Mio. USD (Quelle: Yole 2008 — 2013e; LEDinside

fur 2014e)
2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e
5767 6217 10000 10209 11413 12704 17800

Neben LEDs fir die Hintergrundbeleuchtung von Fernsehgeraten rickt das Thema
generelle Beleuchtung immer mehr in den Vordergrund. Fallende Preise fur LEDs im
Zusammenhang mit der Uberzeugenden Lebensdauer und der guten Lichtausbeute
haben einen Austausch anderer Leuchtmittel gegen LEDs auch fir Privathaushalte
attraktiver gemacht. Wéahrend fiur den globalen LED-Markt ein Wachstum von rund
68 % erwartet wird, liegen die erwarteten Wachstumsraten fur 2014 in Nordamerika
bei plus 72 % und in China bei plus 86 %.

ENDOGENE INDIKATOREN

Kundenzufriedenheit ist ein bedeutender Erfolgsfaktor in der Halbleiterbranche.
Aufgrund der auRerordentlichen Leistungen der SUSS MicroTec-Mitarbeiter konnte
das Unternehmen im Geschaftsjahr 2013 von zwei namhaften asiatischen Packaging
Hausern, SPIL und Amkor, eine Auszeichnung fur unsere herausragenden
Leistungen als Zulieferer bekommen.

Produkt- und Prozessinnovationen sowie die ErschlieBung neuer Marktsegmente
sind ein weiterer Erfolgsfaktor fir das Unternehmen. Produktseitig konnten wir im
Geschaéftsjahr 2013 verschiedene sehr zukunftstrachtige Auftrage fir unser Bonder-
Segment verbuchen. Im Marz 2013 hat ein fihrender asiatischer IDM einen
Folgeauftrag fur die neueste Generation von Produktions-Bondclustern bei uns
platziert. Die Systeme wurden fir das temporédre Bonden von 300 mm-Wafern fir
3D-Integrationsprozesse bei Logik- und Speicheranwendungen konfiguriert.
Daneben haben wir im Verlauf des Geschaftsjahres 2013 mehrere Auftrage fir das
ELP300 Excimer Laser-Stepper System von SUSS MicroTec Photonic Systems
erhalten. Zu den Kunden gehoren zwei US-amerikanische IDMs sowie ein
asiatischer OSAT und das Fraunhofer IZM, Berlin. Mit Hilfe der Lasertechnologie
konnen, unter Umgehung der herkdmmlichen Lithografie- und Atzverfahren,
Mikrostrukturen direkt auf dem Substrat hergestellt werden. Dies sind zwei wichtige
Beispiele, die die Innovationskraft und die technologische Uberlegenheit von SUSS
MicroTec-Maschinen unter Beweis stellen.




Ohne den Einsatz und die Schaffenskraft der Mitarbeiter wéren diese Leistungen
nicht moglich gewesen. Wir haben uns mit dem Erwerb der Immobilie am Standort
Garching neben der Mietersparnis ein hohes Mal3 an operationaler Flexibilitat im
Hinblick auf unternehmensspezifische Anforderungen an die Immobilie gesichert und
bekennen uns klar zur Produktion in Garching.

Am 6. November 2013 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass aufgrund einer
Neubewertung der Geschéftssituation im Bereich Permanentes Bonding und der
weiterhin unbefriedigenden Ertragslage in dieser Produktlinie, die im zweiten Quartal
dieses Jahres eingeleiteten RestrukturierungsmalRnahmen erweitert werden und die
Produktion von Permanenten Bond Cluster Systemen eingestellt wird. Die am Markt
erfolgreichen manuellen Permanent Bonding Systeme waren von dieser Mal3hahme
nicht betroffen. Mit Vollzug dieser Malinahme erwartet das Unternehmen eine
deutliche Reduzierung der Verluste im Segment Substrat Bonder.

GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES
KONZERNS

Zum Jahresende 2013 betragt der Auftragsbestand rund 85,7 Mio. €. Auf Basis
dieses Auftragsbestands und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung fir das
erste Halbjahr 2014 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz fur das
Geschaéftsjahr 2014 in der Bandbreite zwischen 135 Mio. € und 145 Mio. € und ein
Ergebnis (EBIT) zwischen minus 5 und 0 Mio. €. Im Geschéftsjahr 2013 wurde mit
einem Umsatz in H6he von 134,5 Mio. € ein Ergebnis (EBIT) von minus 19,4 Mio. €
erwirtschaftet. Das EBIT fur das Geschéftsjahr 2013 beinhaltet einen Sondereffekt
fur die Restrukturierung des Segments Substrat Bonder in Hohe von 13,2 Mio. €, das
Unternehmen erwirtschaftete somit im Berichtsjahr ein operatives Ergebnis von
minus 6,2 Mio. €.

Das Segment Lithografie wird auch in 2014 gepréagt sein durch die weiterhin
schwierige Auftragslage im Bereich der margenstarken 300mm Gerate sowie die
Ergebnisbelastungen durch SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals Tamarack
Scientific). Gleichwohl wird das Segment Lithografie wieder den grof3ten Umsatz-
und Ergebnisbeitrag fir den Konzern liefern. Wir erwarten gegentber 2013 eine
Umsatzsteigerung zwischen 5 und 10 Prozent und einen gegentber dem Vorjahr
verbesserten EBIT im mittleren bis hoheren einstelligen Millionenbereich. Im
Segment Substrat Bonder erwarten wir einen leichten Umsatzanstieg bei
gleichzeitiger Ergebnisverbesserung, jedoch mit einem weiterhin negativen EBIT im
mittleren einstelligen Millionenbereich. Die Umsatze des Segments Fotomasken
Equipment werden im kommenden Jahr ein Niveau leicht unter 2013 erreichen bei
einem ausgeglichenen EBIT. Am Ziel, das organische Wachstum unseres
Basisgeschafts ohne zusatzliche Fremdmittel bestreiten zu koénnen, halten wir
weiterhin fest.



Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass geméal den anzuwendenden Rechnungslegungs-
grundsétzen der Jahresabschluss ein den tatséchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild
der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht, der
mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, der Geschéftsverlauf einschliefflich des
Geschéftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den
tatséchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen
Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Garching, den 10. Marz 2014
SUSS MicroTec AG

Der Vorstand

Fra rdung 4 Mi?}e/







Zukunftsgerichtete Angaben

Dieser Bericht enthidlt Angaben und Prognosen, die sich auf zukinftige
Entwicklungen des SUSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen.
Die Prognosen stellen Einschatzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum
derzeitigen Zeitpunkt zur Verfugung stehenden Informationen getroffen haben.
Soliten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder
Risiken — wie die im Risikobericht angesprochenen — eintreten, so kdnnen die
tatsachlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 10. Méarz 2014

Der Vorstand
Ferung I\ﬁéhae‘ "

Vorstandsvorsitzender Finaﬁévorstand







BESTATIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRUFERS

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang —
unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der SUSS MicroTec AG, Garching, der mit
dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, flr das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum
31. Dezember 2013 gepriift. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten
Priifung eine Beurteilung iiber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und iiber den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftspriifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsitze ordnungsméaBiger Abschlusspriifung vorge-
nommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufithren, dass Unrichtigkeiten und Verstdfe,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze ordnungs-
maBiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung
der Priifungshandlungen werden die Kenntnisse liber die Geschaftstatigkeit und iiber das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen iiber mdgliche Fehler beriick-
sichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fiir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht
iiberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsétze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungs-
maBiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhdltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
FinanZ- und Ertragstage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und
Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Miinchen, 21. Marz 2014

BDO AG
Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Wirtschaftspriifer







	2014_TOP1_Jahresabschluss 2013 Süss MicroTec AG.pdf
	Bilanz
	Anhang
	Anlagespiegel
	Lagebericht




